
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テープヘッドを横切って移送され、相対するエッジを有する媒体の移送方向に対して、
前記テープヘッド上 書込み素子 正確に位置合わせ

するための装置であって、
　

　前記書込み素子および前記位置合わせ素子は、前記テープヘッドに供給される書込み電
流によって誘発される磁界を生成するように構成され、
　前記書込み素子が生成する前記磁界は、前記媒体上に複数の書込み遷移部を書込み、そ
れにより前記媒体上に書込みバンドを画定し、
　前記位置合わせ素子が生成する前記磁界は、前記移送方向に対して記録された向きを有
する複数の前記位置合わせ遷移部を前記媒体上に書込み、それにより前記媒体上に位置合
わせバンドを画定し、
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に設けられる が されているかどうかを確
認するための位置合わせ遷移部を前記媒体上に記録可能な少なくとも１つの位置合わせ素
子が前記書込み素子と一体に形成される、テープヘッドの書込み素子を視認により位置合
わせすることを可能と

前記テープヘッドを前記媒体の移送方向に対して位置決めする際の基準として定められ
る位置決め基準線に対し、前記位置合わせ素子はその長手方向が前記位置決め基準線と平
行となるように、前記書込み素子はその長手方向が前記位置決め基準線に対して所定の傾
斜角度を有するように、それぞれ配列され、

前記位置合わせバンド内の前記位置合わせ遷移部は、前記位置合わせ遷移部を観測して
前記位置合わせ遷移部の前記記録された向きを求め、前記位置決め基準線が前記媒体の移



ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　

【請求項３】
　

【請求項４】
　

【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
　

　

　

【請求項８】
　

　

【請求項９】
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送方向に対して好ましい向きを有することを前記位置合わせ遷移部の前記記録された向き
が示すまで、前記位置決め基準線と前記移送方向との間の角度を調整することを可能とす
るように構成される

前記位置合わせ素子は、前記位置合わせ遷移部が前記書込み遷移部と干渉せず、前記書
込み遷移部に上書きもせず、かつ他の用途のために予め指定されている前記媒体上の領域
を占有しないように配置されることを特徴とする請求項１に記載の装置。

前記書込み遷移部により、前記媒体上に予め記録されるサーボコードが形成されるよう
に構成されることを特徴とする請求項１に記載の装置。

前記好ましい向きは、前記移送方向に垂直であることを特徴とする請求項１に記載の装
置。

前記ヘッド対媒体角は、前記好ましい向きが前記移送方向と垂直であるときに、９０°
であることを特徴とする請求項４に記載の装置。

前記位置合わせ素子は、その長手方向が前記位置決め基準線に沿って延在するようにし
て前記位置決め基準線上に配設されることを特徴とする請求項１に記載の装置。

前記位置合わせ遷移部を観測するために、前記テープヘッドと所定の関係で配置された
別の読取りヘッドを備え、

前記読取りヘッドは、前記媒体が前記読取りヘッドを横切って移送される際に、前記位
置合わせバンド内に記録された前記位置合わせ遷移部から第１の読取り信号を生成するよ
うに構成された第１の読取り素子を備え、

それにより、
（ａ）　前記第１の読取り信号が、前記記録された向きが前記移送方向に対して好ましい
位置合わせ状態にあることを示す所定のシグネチャと一致し、かつ、
（ｂ）　前記所定のシグネチャが、前記書込み素子が前記移送方向に対して好ましい向き
を有することを示すようになるまで、
前記位置決め基準線と前記移送方向との間の角度を調整することが可能となるように構成
されることを特徴とする請求項１に記載の装置。

前記読取りヘッドはさらに、前記媒体が前記読取りヘッドを横切って移送される際に、
近隣の位置合わせバンド内に記録された前記位置合わせ遷移部から第２の読取り信号を生
成するように構成された第２の読取り素子を備え、かつ、

前記所定のシグネチャは、前記第１の読取り信号および前記第２の読取り信号が指定さ
れた許容範囲の時間内にほぼ同時に生じていることを示すことを特徴とする請求項７に記
載の装置。

少なくとも１つの水平素子を有する第１の近似的な位置合わせパターンであって、前記
位置決め基準線の第１の端部に配置される、第１の近似的な位置合わせパターンをさらに
有し、

少なくとも１つの水平素子を有する第２の近似的な位置合わせパターンであって、前記
位置決め基準線の第２の端部に配置される、第２の近似的な位置合わせパターンをさらに
有し、

前記第１および前記第２の近似的な位置合わせパターンの前記水平素子は、前記書込み
素子および前記位置合わせ素子と一体に形成され、前記水平素子のそれぞれは、その長手
方向が前記位置決め基準線に対して所定の固定された向きに沿って延在するように向きが
定められ、



　

　

　

【請求項１０】
　

【請求項１１】
　
　

　

　

【請求項１２】
　

【請求項１３】
　

　

　

　

【請求項１４】
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前記媒体が前記テープヘッドを横切って移送される際に、前記相対するエッジのうちの
第１のエッジが前記第１の近似的な位置合わせパターンに近接し、前記第１の近似的な位
置合わせパターン内の前記水平素子が前記相対するエッジのうちの前記第１のエッジの外
側で視認することが可能となるように構成され、また前記相対するエッジのうちの第２の
エッジが前記第２の近似的な位置合わせパターンに近接し、前記第２の近似的な位置合わ
せパターン内の前記水平素子が前記相対するエッジのうちの前記第２のエッジの外側で視
認することが可能となるように構成され、

前記第１および第２の近似的な位置合わせパターン内の前記水平素子のいずれか一方ま
たは両方が、前記相対するエッジのうちの対応する前記第１のエッジ、前記第２のエッジ
と平行になるまで前記ヘッド対媒体角を調整することにより、前記位置決め基準線と前記
移送方向との間の視認による近似的な位置合わせを行うことが可能に構成され、

前記近似的な視認位置合わせの後に、前記テープヘッドは、前記視認可能な水平素子が
隠れるように再配置されることが可能となるように構成される、
ことを特徴とする請求項１に記載の装置。

前記各相対するエッジの外側で視認可能な前記第１および前記第２の近似的な位置合わ
せパターン内の前記水平素子が、前記テープヘッドを調整して前記媒体に対して前記テー
プヘッドを視覚的に中央に位置するようにするために用いることが可能となるように構成
されることを特徴とする請求項９に記載の装置。

前記第１および前記第２の近似的な位置合わせパターンが、
垂直素子であって、その長手方向が前記位置決め基準線に沿って延在するようにして前

記位置決め基準線上に配設され、かつ前記水平素子と一体に形成された、垂直素子を備え
、

前記第１および前記第２の近似的な位置合わせパターン内の前記垂直素子の少なくとも
一部は前記各相対するエッジの外側で視認することができ、それにより両方の前記垂直素
子が前記移送方向に対する前記位置決め基準線の向きを正確に視認することが可能な指示
子として機能し、当該の機能を用いて、

前記第１および前記第２の近似的な位置合わせパターン内の前記垂直素子の一方あるい
は両方が、前記第１のエッジあるいは前記第２のエッジに対して好ましい対エッジ方向を
有するまで前記ヘッド対媒体角を調整することにより、前記位置決め基準線と前記移送方
向との間の前記視認による近似的な位置合わせを行うことが可能となるように構成される
、
ことを特徴とする請求項９に記載の装置。

前記好ましい対エッジ方向は、前記相対するエッジに垂直であることを特徴とする請求
項１１に記載の装置。

前記書込み素子および前記位置合わせ素子と一体に形成される少なくとも１つの読取り
素子をさらに備え、

前記媒体が前記テープヘッドを横切って前記移送方向に移送される際に、前記位置合わ
せ遷移部が前記読取り素子上を通過するように、前記読取り素子及び前記位置合わせ素子
は位置合わせされて一体に形成されており、

前記読取り素子は、前記位置合わせ遷移部に応答して読取り信号を生成するように構成
され、

前記読取り信号は、前記読取り信号の大きさが、前記位置合わせ遷移部が良好に書き込
まれたことを示す程度であるか否かを判定するために解析されるように構成される、
ことを特徴とする請求項１に記載の装置。

前記位置合わせ素子に対する前記書込み電流は、前記読取り信号の大きさが前記位置合



【請求項１５】
　

【請求項１６】
　

　

【請求項１７】
　

【請求項１８】
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わせ遷移部が良好に書き込まれたことを示さないときに増されることを特徴とする請求項
１３に記載の装置。

前記位置合わせ素子は、他の用途のためにあらかじめ指定されている前記媒体上の領域
を前記位置合わせ遷移部が占有するように配置されることを特徴とする請求項１に記載の
装置。

前記媒体は、別に設けられたデータヘッドを横切るようにして前記移送方向に沿って移
送され、前記データヘッドは、前記データヘッドを前記媒体の移送方向に対して位置決め
する際の基準として定められる、データヘッド位置決め基準線に沿う向きに配列される複
数のデータ素子を備え、前記データ素子はそれぞれ、前記位置合わせ遷移部が前記データ
素子上を通過するのに応答して、データ信号を生成するように構成され、前記位置合わせ
遷移部は前記媒体上に予め記録されていて前記移送方向に対して好ましい位置合わせ状態
を有し、

前記データ素子のうちの少なくとも２つから出力される前記データ信号を解析し、前記
データ信号が、前記データヘッドが前記移送方向に対して好ましい方位角を有しているこ
とを示すシグネチャと一致するまで、前記データヘッド位置決め基準線と前記移送方向と
の間のデータヘッド対媒体角を調整することにより、前記データヘッドと前記移送方向と
の間の前記正確な位置合わせが得られるように構成される、
ことを特徴とする請求項１５に記載の装置。

前記データヘッドは少なくとも１つの書込み素子をさらに備え、前記少なくとも１つの
書込み素子は、その長手方向が前記位置決め基準線に対して所定の傾斜角度を有するよう
に配列され、前記データヘッドが前記移送方向に対して前記好ましい方位角を有するとき
に、前記書込み素子の前記長手方向および前記複数のデータ素子が配列される前記向きは
いずれも前記移送方向に対して好ましい方位角を有するように構成されることを特徴とす
る請求項１６に記載の装置。

テープヘッドを横切って移送され、相対するエッジを有する媒体の移送方向に対して、
前記テープヘッドの書込み素子を視認により近似的に位置合わせすることを可能とするた
めの装置であって、

前記テープヘッドを前記媒体の移送方向に対して位置決めする際の基準として定められ
る位置決め基準線の第１の端部に配置され、少なくとも１つの水平素子を有する第１の近
似的な位置合わせパターンを備え、

前記位置決め基準線の第２の端部に配置され、少なくとも１つの水平素子を有する第２
の近似的な位置合わせパターンを備え、

前記第１および前記第２の近似的な位置合わせパターン内の前記水平素子は、前記書込
み素子と一体に形成され、前記の各水平素子は、その長手方向が前記位置決め基準線に対
して所定の固定された向きに沿って延在するように向きが定められ、

前記書込み素子は、前記テープヘッドに供給される書込み電流によって誘発される磁界
を生成するように構成され、前記磁界は、前記媒体上に複数の書込み遷移部を書込み、そ
れにより前記媒体上に書込みバンドを画定し、

前記媒体が前記テープヘッドを横切って移送される際に、前記相対するエッジのうちの
第１のエッジが、前記第１の近似的な位置合わせパターンに近接し、前記第１の近似的な
位置合わせパターン内の前記水平素子は前記相対するエッジのうちの前記第１のエッジの
外側で視認可能となるように構成され、かつ、前記相対するエッジのうちの第２のエッジ
が、前記第２の近似的な位置合わせパターンに近接し、前記第２の近似的な位置合わせパ
ターンの前記水平素子は前記相対するエッジのうちの前記第２のエッジの外側で視認可能
となるように構成され、

前記第１および第２の近似的な位置合わせパターン内の前記水平素子のいずれか一方ま



【請求項１９】
　

【請求項２０】
　

【請求項２１】
　
　

　

　

【請求項２２】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は全般に、テープヘッドを、テープヘッドを横切って移送される媒体の移送方向
と正確に位置合わせするための少なくとも１つの位置合わせ素子を含むテープヘッドに関
する。より具体的には、本発明は、テープヘッドの書込み素子と一体に形成され、書込み
素子が、テープヘッドを横切って移送される媒体の移送方向と正確に位置合わせできるよ
うにテープヘッドの磁軸と位置合わせされる、少なくとも１つの位置合わせ素子を含むテ
ープヘッドに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　１つのパスにおいて、テープの全長に沿って１つあるいは複数の個別のサーボバンドに
サーボコードを書き込むサーボライタヘッドがよく知られている。サーボコードは、サー
ボライタヘッド上に形成される書込み素子（磁気変換器）によってテープ上に書き込まれ
る。書込み素子は、たとえば、シェブロンパターンのような所定のパターンを有する。サ
ーボバンドは、あるピッチだけ離れ り、近接するサーボバンド間の領域は、たとえば
、データ記憶のような用途のために確保される。典型的には、個別のサーボバンドの少な
くとも２つのサーボバンド上にあるサーボコードはサーボ信号を生成するために用いられ
、そのサーボ信号は、テープの長さに沿った１つあるいは複数の個別のデータバンドに対
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たは両方が、前記相対するエッジのうちの対応する前記第１のエッジ、前記第２のエッジ
と平行になるまで前記位置決め基準線と前記移送方向との間のヘッド対媒体角を調整する
ことにより、前記移送方向に対する前記書込み素子を前記視認により近似的に位置合わせ
することが可能となるように構成される、
ことを特徴とする装置。

前記第１および前記第２の近似的な位置合わせパターンはさらに、第２の可変のピッチ
だけ離隔して配置された複数の水平素子をそれぞれ備えることを特徴とする請求項１８に
記載の装置。

前記各相対するエッジの外側で視認することができるように構成される前記第１および
前記第２の近似的な位置合わせパターン内の前記水平素子は、前記媒体に対して前記テー
プヘッドを視覚的に中央に配置するように前記テープヘッドを調整するために用いられる
ことを特徴とする請求項１８に記載の装置。

前記第１および前記第２の近似的な位置合わせパターンはさらに、
垂直素子であって、その長手方向が前記位置決め基準線に沿って延在するようにして前

記位置決め基準線上に配設され、かつ前記水平素子と一体に形成された、垂直素子をそれ
ぞれ備え、

前記第１および前記第２の近似的な位置合わせパターン内の前記垂直素子の少なくとも
一部は、双方の前記垂直素子が前記移送方向に対する前記位置決め基準線の場所の正確な
視認可能な指示子として機能するように、それぞれの前記相対するエッジの外側で視認可
能となるように構成され、

前記第１および前記第２の近似的な位置合わせパターン内の前記垂直素子の一方あるい
は両方が、前記各第１および第２のエッジに対して好ましいエッジ向きを有するまで、前
記ヘッド対媒体角を調整することにより、前記移送方向に対する前記書込み素子の、前記
視認による近似的な位置合わせを行うことが可能となるように構成される、
ことを特徴とする請求項１８に記載の装置。

前記好ましいエッジ向きは、前記相対するエッジに対して垂直であることを特徴とする
請求項２１に記載の装置。

てお



して、データの読出し、あるいは書込みを行うために読出し／書込みヘッド上のデータ素
子を正確な位置に位置合わせするために用いられる。そのデータバンドは、サーボバンド
間の領域に配置される。サーボコードは、テープの製造中にテープ上に予め記録され、個
別のサーボバンドが、テープの幅にわたる所定の場所に配置される。それらの所定の場所
は、テープのためのフォーマット仕様によって定義することができる。たとえば、フォー
マット仕様は、サーボバンドの数、データバンドの数、テープの幅にわたる互いに対する
その位置を決定する。
【０００３】
　より多くのデータがテープ上の同じ量の物理的な空間に格納されるので、より良好な基
準および位置精度が必要である。格納されるデータの量を増やすために、書込みおよび読
出し素子の機構サイズをミクロンあるいはサブミクロンの寸法にまで縮小し、テープの幅
にわたって収容することができるデータバンドの数を増加させるようにしなければならな
い。テープをサーボ書込みするには、書込みおよびデータ素子の機構サイズが縮小するの
に応じて、一層高い精度が要求される。サーボコードがテープに書き込まれる際に、サー
ボコードは書込み素子のパターンの中央に配置され、直線状にテープを走査するために、
できるだけテープの移動方向に垂直でなければならない。
【０００４】
　理想的には、テープがサーボライタヘッド上を移送されるとき、書込み素子のためのパ
ターンは、ヘッド上のテープの移動方向に対して正確に向けられるべきである。典型的に
は、その向きはテープの移動方向に垂直である。大部分の応用形態では、サーボライタヘ
ッダは、たとえば、フィールド交換可能ユニット（以下、ＦＲＵ）のような取付具あるい
は治具に取り付けられる。ＦＲＵは、サーボライタ ドを、テープに対して固定された
方向に配置する。ＦＲＵは、サーボライタヘッドをテープおよび／またはテープの移動方
向に対して位置合わせできるように、サーボライタヘッド、ＦＲＵあるいはその両方の位
置がテープに対して調整されるように設計することができる。
【０００５】
　サーボライタヘッドを位置合わせすることを試みる従来の方法は、サーボライタヘッド
上に視認可能な指示子を配置することを含む。典型的には、視認可能な指示子は、サーボ
ライタヘッドの磁軸の場所を近似するように配置される。視認可能な指示子がテープの移
動方向に垂直に、あるいはテープエッジのうちの一方あるいは両方に垂直になるように見
えるまで、テープに対して方位角を調整することにより、サーボライタヘッドが位置合わ
せされる。視認可能な指示子を形成するための方法は、道具を用いてサーボライタヘッド
にマークを付し、視認可能な指示子を形成することを含む。たとえば、刻み（あるいは切
り込み）を入れたマークを用いて、視認可能な指示子を形成することができる。
【０００６】
　図１ ａおよび図１ ｂを参照すると、従来技術のテープヘッド２００は、テープヘッ
ド２００の磁軸２５０に沿って配置される１つあるいは複数の書込み変換器２４１を備え
る。相対するエッジ２２１および２２３を有するテープ２２０は、テープヘッド２００に
接触し、移送方向Ｄにテープヘッド２００を横切って移送される。視認可能な指示子２１
５がテープヘッド２００上に形成され、テープヘッド２００上の全体の基準点を規定する
ように機能する。典型的には、視認可能な指示子２１５は磁軸２５０の近似的な場所を規
定する。テープヘッド２００の位置は、視認可能な指示子２１５が、約９０°の角度を表
す角度 1によって示されるように、移送方向Ｄに概ね垂直に見えるまで、テープ２２０
に対して調整される（２５１）。視認可能な指示子２１５が抱える１つの欠点は、テープ
ヘッド２００上の指示子２１５の場所が全体の基準点、すなわち磁軸２５０の近似にしか
ならないことである。テープヘッド２００が製造された後に、視認可能な指示子２１５が
テープヘッド２００上に形成されるので、視認可能な指示子２１５を磁軸と正確に位置合
わせすることは、不可能ではないにしても非常に難しい。それゆえ、視認可能な指示子２
１５を通る軸２１７は、磁軸２５０と同一直線上にはなく、その結果として、磁軸２５０
は、移送方向Ｄに垂直ではない方位角ａ 3（すなわち 3≠９０°）を有することになる。
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軸２１７は磁軸２５０から変位し（図１ ｂを参照）、磁軸２５０とは平行でない可能性
が非常に高い。結果として、視認可能な指示子２１５は、書込み変換器２４１を移送方向
Ｄと正確に位置合わせするために用いることができる正確な指示子とはならない。さらに
、書込み変換器２４１がミクロンあるいはサブミクロン範囲の機構サイズを有する場合に
は、視認可能な指示子２１５によって引き起こされるわずかな位置合わせ誤差であっても
、書込み変換器２４１と移送方向Ｄとの実質的な位置合わせ不良が生じるようになる。
【０００７】
　また、サーボライタヘッドを位置合わせするための従来の試みは、サーボライタヘッド
をテープと位置合わせするために、サーボライタヘッドの相対する辺を用いることも含ん
でいた。このアプローチは、サーボライタヘッドの相対する辺が、その相対する辺が互い
に平行に、かつサーボライタヘッドの磁軸に平行および／または垂直になるように製造さ
れていることを想定している。しかしながら、実際には、サーボライタヘッドは、鋸歯等
を用いて切断される場合がある。結果として、相対する辺は厳密には互いに平行にはなら
ないであろう。たとえば、サーボライタヘッドは、長方形を有するのではなく、平行四辺
形の形状を有するであろう。
【０００８】
　図２ ａおよび図２ ｂを参照すると、従来技術のテープヘッド３００は、互いに平行
ではなく、かつテープヘッド３００の磁軸３５０に平行あるいは垂直ではない相対する辺
３０１および３０３を有する（すなわちテープヘッド３００は、長方形ではない形状を有
する）。テープヘッド３００は、磁軸３５０に沿って配置される１つあるいは複数の書込
み変換器３４１を備える。相対するテープエッジ３２１および３２３を有するテープ３２
０はテープヘッド３００と接触し、移送方向Ｄにテープヘッド３００を横切って移送され
る。一方の辺３０１上の片側の軸３０５は、相対する辺３０１の一方あるいは両方が、図
２ ｂの角度 2によって示されるように、相対するテープエッジ（３２１および３２３
）の一方あるいは両方と垂直になるように見えるまで調整される（３５１）。しかしなが
ら、相対する辺３０１は互いに平行ではないので、角度 2がテープエッジ（３２１およ
び３２３）に垂直になるように見えるとき、磁軸３５０は移送方向Ｄに垂直にはならない
。これは、片側の軸３０５が磁軸３５０に平行ではないことに一部起因することに留意さ
れたい。結果として、磁軸３５０は、片側の軸３０５が角度ａ 2であるとき、移送方向Ｄ
に垂直ではない角度ａ 4をなす（すなわち、 4≠９０°である）。同様に、相対する辺３
０３を用いて、相対する辺３０３のいずれか一方が、相対するテープエッジ３２１および
３２３の一方あるいは両方に平行になるように、テープヘッド３００を位置合わせする場
合には、相対する辺３０１がテープエッジ（３２１および３２３）に平行になるように見
えるとき、磁軸３５０は、移送方向Ｄに垂直にはならないであろう。それゆえ、磁軸３５
０が移送方向Ｄに垂直でない場合には、書込み変換器３４１も移送方向Ｄに垂直にはなら
ない。
【０００９】
　サーボライタヘッドの応用形態では、上記の位置合わせの問題の結果、製造中にテープ
上に書き込まれるサーボコードの方位角に誤差が生じるようになる。たとえば、リニアテ
ープオープン（ＬＴＯ）フォーマットでは、サーボコードは、５つのバンドにおいてテー
プ上に書き込まれる。データヘッドのテープへの位置合わせは、近接するサーボバンド間
のバンド対バンドの位置合わせを用いて達成される。その近接するサーボバンド内のサー
ボコードを用いて、近接するバンド内のサーボコードの平均値である位置信号を導出する
。サーボライタヘッドの書込み変換器が移送方向に位置合わせされないとき、近接するサ
ーボバンドのうちの１つのサーボコードが、別の近接するサーボバンド内のサーボコード
より先にテープ上に書き込まれるであろう（すなわち、テープ上で視認されるとき、１つ
のサーボバンドが他のサーボバンドより先に書き込まれるように見えるであろう）。結果
として、近接するサーボバンド内のサーボコードは、位置信号を導出するために用いられ
る平均値にスキュー（バンド間スキュー）を発生させる固有の方位角誤差を有する。バン
ド間スキューによって、バンドＩＤ不良が発生するようになるか、あるいはバンド間スキ
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ューによって、データヘッドを位置決めするために長い時間がかかるようになる。
【００１０】
　上記のように、変換器の機構サイズを縮小するには、上記の従来技術を用いて達成する
ことができる位置合わせ精度より高い精度が要求される。たとえば、サーボコードが、テ
ープに書き込まれる、あるいはテープから読み出されるデータより前にテープ上に予め記
録される同一面サーボ（ same-surface- application）の応用形態では、サーボバン
ドがテープの移動方向に平行で、かつサーボコードがテープの移動方向に垂直に位置合わ
せされるように、サーボコードがテープに正確に位置合わせされることが重要である。サ
ーボコードがテープに正確に位置合わせされない場合には、サーボコードは、近接するデ
ータバンド内のデータを占有および／または干渉するようになる。データがテープに書き
込まれる前に、サーボコードがテープ上に予め記録されるので、結果的な位置合わせ不良
は、テープが製造された後に補正することはできない。それゆえ、製造中に正確な位置合
わせを行うことが不可欠である。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
　それゆえ、テープヘッド上の書込み素子を、テープヘッドを横切って移送されるテープ
の移送方向と正確に位置合わせすることが必要とされる。さらに、バンド間スキューが著
しく低減あるいは排除されるように、テープヘッド上の書込み素子を、テープヘッドを横
切って移送されるテープの移送方向と正確に位置合わせすることが必要とされる。また、
テープヘッドの相対する辺が平行であるか、あるいはテープヘッドに物理的にマークを付
すことによらずに、書込み素子をテープの移送方向と全体的に位置合わせすることが必要
とされる。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　概して、本発明は、少なくとも１つの書込み素子と、書込み素子と一体に形成される１
つあるいは複数の位置合わせ素子とを含むテープヘッドにおいて具現される。位置合わせ
素子および書込み素子は、テープヘッドの磁軸に対して固定された向きを有する。書込み
素子および位置合わせ素子はいずれも、テープヘッドに供給される書込み電流によって誘
発される磁界を生成するように機能する。書込み素子からの磁界は、移送方向においてテ
ープヘッドを横切って移送される媒体上の書込みバンドに、複数の書込み遷移部 (transit
ion)を書き込む。同様に、各位置合わせ素子からの磁界は、媒体上の位置合わせバンドに
複数の位置合わせ遷移部を書き込む。移送方向に対する書込み素子の正確な位置合わせは
、個別の位置合わせバンド内の位置合わせ遷移部を観測し、その後、その観測された位置
合わせ遷移部が、書込み素子が移送方向に位置合わせされたことを示すまで、磁軸と移送
方向との間のヘッド対媒体角を調整することにより達成することができる。
【００１３】
　本発明の一実施形態では、テープヘッドは、書込み素子と一体に形成される１つの位置
合わせ素子を含み、書込み素子および位置合わせ素子はいずれも、磁軸に対して固定され
た向きを有する。位置合わせ素子からの磁界が、媒体上の１つの位置合わせバンドに複数
の位置合わせ遷移部を書き込む。移送方向に対する書込み素子の正確な位置合わせは、そ
の１つの位置合わせバンド内の位置合わせ遷移部を観測し、その後、その観測された位置
合わせ遷移部が、書込み素子が移送方向に位置合わせされたことを示すまで、磁軸と移送
方向との間のヘッド対媒体角を調整することにより達成することができる。
【００１４】
　移送方向に対する書込み素子の位置合わせが、テープヘッドの形状には依存しないため
、互いに対して平行ではないテープヘッドの辺によって引き起こされる上記の位置合わせ
不良は、本発明によって解決される。それゆえ、テープヘッドの辺は、互いに対して平行
である必要はない。さらに、移送方向に対する書込み素子の位置合わせが、媒体上の位置
合わせ遷移部を観測することにより判定されるので、視認可能な指示子が磁軸と位置合わ
せされないことに起因すると考えられる位置合わせ不良も、本発明によって解決される。
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それゆえ、テープ上に不完全な視認可能な指示子を設けることは、実質的に必要ではなく
なる。
【００１５】
　さらに、より高い位置合わせ精度に対する要求、およびより良好な基準および位置精度
に対する要求は、本発明の位置合わせ素子によって解決される。書込み素子および位置合
わせ素子はいずれも磁軸に対して固定された向きを有するので、移送方向に対する書込み
素子の向きは、媒体上に書き込まれる位置合わせ遷移部の向きから判定することができる
。
【００１６】
　バンド間スキューに関連する問題は、バンド間スキューが移送方向に対する書込み素子
の位置合わせ不良によって引き起こされるので、本発明の位置合わせ素子によって排除、
あるいは著しく低減することができる。結果として、サーボバンド間の方位角誤差は、書
込み素子が、媒体上に書き込まれる位置合わせ遷移部によって示されるような移送方向と
位置合わせされるときに、無視することができる。
【００１７】
　別の実施形態では、本発明は、書込み素子と一体に形成される水平および／または垂直
素子を備えることができる。水平素子は、互いに平行で、かつ磁軸に垂直である。媒体の
相対するエッジに対するテープヘッドの全体的な視認による位置合わせは、水平素子が、
媒体の相対するエッジのいずれか一方あるいは両方に対して平行に見えるようになるまで
、ヘッド対媒体角を調整することにより達成することができる。移送方向に対するテープ
ヘッドの全体的な視認による位置合わせが、垂直素子が移送方向に垂直に、あるいは相対
するエッジの一方または両方に垂直に見えるまで、ヘッド対媒体角を調整することにより
達成できるように、垂直素子は磁軸と同一直線上にあり、かつ磁軸の場所を正確に指示す
る。水平および垂直素子は、全体的な視認による位置合わせを達成するために、個別に、
あるいは組み合わせて用いることができる。
【００１８】
　視認可能な指示子を用いることに関する上記の問題は、本発明の垂直素子によって解決
される。第一に、垂直素子が磁軸の場所の視認可能な正確な指示を与えるように、垂直素
子は書込み素子と一体に形成され、かつ磁軸と同一直線上にある。それゆえ、従来技術の
視認可能な指示子とは異なり、テープヘッドが製造された後に、磁軸の場所を推測あるい
は近似する必要はない。第二に、垂直素子は磁軸と同一直線上にあるため、それらは磁軸
に平行でもある。結果として、垂直素子が、移送方向に対して、あるいは相対するエッジ
の一方あるいは両方に対して視覚的に垂直である場合には、磁軸は、移送方向と全体的に
垂直に位置合わせされている。同様に、水平素子は磁軸に垂直であるので、水平素子が相
対するエッジあるいは移送方向に視覚的に平行である場合には、磁軸も、移送方向と全体
的に垂直に位置合わせされている。
【００１９】
　さらに、相対するテープエッジおよび／または移送方向に対する磁軸の全体的な位置合
わせが、テープヘッドの形状、あるいはテープヘッドにおける平行な辺の欠如とは無関係
であるので、テープヘッドの辺が互いに平行ではない場合の上記の問題は、本発明の水平
および垂直素子によって実質的に意味がなくなる。
【００２０】
　本発明のさらに別の実施形態では、位置合わせ素子によって生成される位置合わせ遷移
部を用いて、媒体の移送方向に対するテープヘッドの位置合わせを達成する。位置合わせ
遷移部からある信号が導出され、その信号を用いて、媒体の移送方向に対するテープヘッ
ドの方位角を調整する。位置合わせ遷移部は、他に使用するために予め指定されている媒
体上の領域を占有することができ、位置合わせ遷移部は、その後、テープヘッドによって
上書きすることもできる。
【００２１】
　それゆえ、テープに対してデータの読み出しおよび／または書き込みを行うテープヘッ
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ドを、テープの移送方向と位置合わせするための要求は、本発明の位置合わせ素子によっ
て取り扱われる。たとえば、データを記憶するために用いられることになるテープの製造
中に、位置合わせ素子を含むテープヘッドを用いて、テープ上に位置合わせ遷移部を書き
込むことができる。製造後、テープは、データの読出しおよび／または書込みを行うよう
に構成されるデータヘッドを横切って移送されることができる。データヘッドは、位置合
わせ遷移部を読み出す変換器を備えることができ、そこからの信号を処理し、かつ使用し
て、データヘッドがテープの移送方向と位置合わせされるように、データヘッドの方位角
を調整することができる。位置合わせ遷移部は、テープに永続的に書き込まれることがで
きるか、あるいはその後、データヘッドによって上書きすることができる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
　本発明の他の態様および利点は、例を用いて本発明の原理を示す、添付の図面とともに
取り上げられる以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
【００２３】
　以下の詳細な説明およびいくつかの図面では、同様の素子は同様の参照番号で特定され
る。
【００２４】
　例示するための図面に示されるように、本発明は、テープヘッドの少なくとも１つの書
込み素子を、テープヘッドを横切って移送される媒体の移送方向と正確に位置合わせする
ための装置において具現される。テープヘッドは少なくとも１つの位置合わせ素子を備え
る。位置合わせ素子は書込み素子と一体に形成され、位置合わせ素子および書込み素子は
いずれも、テープヘッドの磁軸に対して第１の固定された向きを有する。さらに、位置合
わせ素子は、第１の可変のピッチだけ近接する位置合わせ素子から離隔して配置されるこ
とができる。書込み素子および位置合わせ素子は、テープヘッドに供給される書込み電流
によって誘発される磁界を生成する。書込み素子からの磁界は、媒体上に複数の書込み遷
移部を書き込む。その書き込まれた遷移部は、媒体上の書込みバンドを画定する。同様に
、位置合わせ素子からの磁界は、媒体上に複数の位置合わせ遷移部を書き込み、それによ
り媒体上の位置合わせバンドを画定する。位置合わせ遷移部は、移送方向に対して記録さ
れた向きを有する。位置合わせ素子は、書込み素子に対して、媒体上に書き込まれる位置
合わせ遷移部が、書き込まれた遷移部と干渉せず、かつ書き込まれた遷移部を上書きしな
いように配置することができる。さらに、位置合わせ遷移部は、他に使用するために予め
指定されている媒体上の領域を占有しないように、媒体上に配置することができる。移送
方向に対する書込み素子の正確な位置合わせは、位置合わせバンド内の位置合わせ遷移部
を観測し、位置合わせ遷移部の記録された向きが、書込み素子が移送方向に対して好まし
い向きを有することを示すまで、テープヘッドの磁軸と媒体の移送方向との間のヘッド対
媒体角を調整することにより得られる。
【００２５】
　ここで、図３、図４、図５および図６が参照され、その図面では、テープヘッド１０は
、少なくとも１つの書込み素子４１（２つの書込み素子４１が示される）と、少なくとも
１つの位置合わせ素子３１（ が示される）とを備える。位置合わせ素子３１は、以下
に説明されるように、テープヘッド１０の製造中に書込み素子４１と一体に形成される。
位置合わせ素子３１は、第１の可変のピッチ（Ｐ 1、Ｐ 2）だけ互いから離隔して配置され
る。第１の可変のピッチ（Ｐ 1、Ｐ 2）は、位置合わせ素子３１の中央の間で測定すること
ができる（図３に示される）か、あるいは、第１の可変のピッチ（Ｐ 1、Ｐ 2）を測定する
ために、たとえば、１つの位置合わせ素子３１の上端から別の位置合わせ素子３１の下端
までの距離のような、いくつかの他の基準点を選択することができる。好ましい実施形態
では、第１の可変のピッチ（Ｐ 1、Ｐ 2）は互いに等しい（すなわち、Ｐ 1＝Ｐ 2）。しかし
ながら、第１の可変のピッチ（Ｐ 1、Ｐ 2）は等しい必要はなく、位置合わせ素子３１間で
変更することができる。たとえば、ピッチＰ 1は、ピッチＰ 2より長くすることができ、そ
の逆にすることもできる。位置合わせ素子３１および書込み素子４１は、磁界（図示せず
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）を生成するように構成される。磁界は、テープヘッド１０に供給される書込み電流（図
示せず）によって誘発される。書込み電流を供給するために必要とされる原理および電子
装置は、テープヘッド技術においてよく知られている。たとえば、コイルを形成するため
に、テープヘッド１０内に形成されるアパーチャ（図示せず）を通して導体（図示せず）
を引き回すことができる。導体に供給される電流が、磁界を誘発することができる。
【００２６】
　図４では、書込み素子４１からの磁界が、媒体２０上の複数の書込み遷移部４３を書き
込む。媒体２０は、相対するエッジ２１および２３を備え、移送方向Ｔにテープヘッド１
０を横切って移送される。媒体２０には、たとえば、データ記憶の応用形態において用い
られるタイプのような磁気テープを用いることができる。書込み遷移部４３は、媒体２０
上の書込みバンド４５を画定する。同様に、位置合わせ素子３１からの磁界は、媒体２０
上に複数の位置合わせ遷移部３３を書き込む。位置合わせ遷移部３３は、媒体２０上の位
置合わせバンド３５を画定する。移送方向Ｔは、左から右の方向にテープヘッド１０を横
切って移動するように示されるが、本発明の原理は、右から左への移送方向にも同様に当
てはまる。位置合わせ素子３１は、媒体２０に書き込まれる位置合わせ遷移部３３が、書
き込まれた遷移部４３と干渉せず、遷移部４３を上書きしないように、書込み素子４１に
対して配置することができる。さらに、位置合わせ遷移部３３は、位置合わせ遷移部３３
が、他に使用するための予め指定されている媒体２０上の領域Ａ（４つが示される）を占
有しないように、媒体２０上に配置することができる。
【００２７】
　領域Ａのための応用形態は、磁気テープ上のデータ記憶のためのフォーマット仕様に準
拠することを含む。たとえば、フォーマット仕様は、リニアテープオープンフォーマット
（ＬＴＯ）、ＵＬＴＲＩＵＭ（登録商標）フォーマット、ＴＲＡＶＡＮ（登録商標）フォ
ーマット、およびＭＡＧＳＴＡＲ（登録商標）ＭＰ３５７０フォーマットを含むことがで
きる。典型的な高密度テープ記憶の応用形態のためのフォーマット仕様では、領域Ａは、
複数のデータバンドを含むことができる。各データバンドは、データヘッドを用いて、デ
ータバンドに書き込まれるか、あるいはデータバンドから読み出されるデータを含む。書
込み素子４１が媒体２０上にサーボコードを書き込むサーボライタヘッドの応用形態では
、その技術に関して、サーボコードを含む書き込まれた遷移部４３が、データバンド内の
データと干渉せず、そのデータを上書きしないことがよく知られている。したがって、媒
体２０上の互いに対する書込みバンド４５、位置合わせバンド３５および任意のデータバ
ンドの位置は、フォーマット仕様によって規定されるであろう。
【００２８】
　本発明の一実施形態では、書き込まれた遷移部４３は、媒体２０上に予め記録されるサ
ーボコードを含む。サーボコードは、製造プロセスの一部として予め記録することができ
る。サーボコードは、書込みバンド４５が移送方向Ｔに平行である有効なサーボバンドに
なるように、書込みバンド４５を占有する。領域Ａは、位置合わせ遷移部３３がサーボコ
ードを上書きせず、かつ位置合わせ遷移部３３がサーボコードと干渉しないように、サー
ボバンドを含むことができる。位置合わせ遷移部３３がサーボコードに接近し、位置合わ
せ遷移部３３からの磁界がサーボコードと接触する場合には、サーボコードとの干渉が生
じるようになり、それによりサーボコードを上書きするか、消去するか、あるいはサーボ
コードに誤りを発生させる。そのフォーマット仕様は、位置合わせ遷移部３３とサーボコ
ードとの間に悪影響を及ぼすのを防ぐように設計されるべきである。
【００２９】
　第１の固定された向きＯ 1は、磁軸Ｍと同一直線上になるようにでき、その結果、位置
合わせ素子３１は互いに同一直線上にあり、磁軸Ｍに沿って位置合わせされる（図３およ
び図５を参照されたい）。一方、第１の固定された向きＯ 1は、磁軸Ｍに平行であり、位
置合わせ素子３１は、図６の平行な軸Ａ 1およびＡ 2によって示されるように、磁軸Ｍから
オフセットされた位置を有する。平行な軸（Ａ 1およびＡ 2）のうちの同じ軸に沿って配置
される位置合わせ素子３１は、互いに同一直線上にある（軸Ａ 1を参照されたい）。
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【００３０】
　ここで図５、図６、図７ ａ、図７ ｂ、図８ ａ、図８ ｂが参照され、その中では
、媒体２０が、移送方向Ｔにテープヘッド１０を横切って移送される。位置合わせ素子３
１によって媒体２０上に書き込まれる位置合わせ遷移部３３を観測し（図４参照）、個別
の位置合わせバンド３５内の位置合わせ遷移部３３の記録された向きΔ 1（図７ ａ、図
７ ｂ、図８ ａおよび図８ ｂ参照）が、書込み素子４１が移送方向Ｔに対して好まし
い向きβを有することを示す（図５および図６参照）まで、磁軸Ｍと移送方向Ｔとの間の
ヘッド対媒体角θを調整することにより、 移送方向Ｔと正確に位置合わ
せすることができる。それゆえ、媒体２０がテープヘッド１０を横切って移送されるのに
応じて、ヘッド対媒体角θがθ 1からθ 2に調整されるので、位置合わせ遷移部３３の記録
された向きΔ 1は、図７ ａ、図７ ｂおよび図８ ａ、図８ ｂに示されるようにΔ 1か
らΔ 2に変化する。
【００３１】
　本発明の一実施形態では、好ましい向きβは移送方向Ｔに垂直であり、ヘッド対媒体角
θ 2は９０°である。第１の固定された向きＯ 1が磁軸Ｍと同一直線上にあるので、ヘッド
対媒体角θ 2が９０°であるとき、好ましい向きβも９０°である。また、ヘッド対媒体
角θ 2が９０°であるとき、記録された向きΔ 2も９０°である。しかしながら、本発明は
、ここに図示および記載される角度に限定されるものと解釈されるべきではない。好まし
い向きβ、記録された向きΔ 2、およびヘッド対媒体角θは、９０°以外の角度にするこ
とができる。さらに、その角度は互いに同じである必要はない。たとえば、ヘッド対媒体
角θが９０°であるとき、記録された向きΔ 2は４５°に、好ましい向きβは６０°にす
ることができる。好ましい向きβ、記録された向きΔ 2、およびヘッド対媒体角θの間の
実際の関係は、応用形態によるであろう。
【００３２】
　本発明の別の実施形態では、図５および図７ ｂに示されるように、位置合わせ素子３
１が互いに同一直線上にあり、磁軸Ｍに沿って位置合わせされるように、第１の固定され
た向きＯ 1が磁軸Ｍと同一直線上にある。それゆえ、記録された向きΔ 2が移送方向Ｔに垂
直である場合、磁軸Ｍが移送方向Ｔにほぼ正確に垂直に位置合わせされているとき（すな
わちθ 2＝９０°）、近接する位置合わせバンド３５内の位置合わせ遷移部３３は互いに
同一直線上にある。
【００３３】
　図６および図８ ｂを参照すると、本発明のさらに別の実施形態では、図６の平行な軸
Ａ 1およびＡ 2によって示されるように、第１の固定された向きＯ 1は磁軸Ｍに平行である
。 に沿って配置された位置合わせ素子３１は互いに同一直線上にあり
、磁軸Ｍに平行である（軸Ａ 1を参照）。結果として、記録された向きΔ 2が移送方向Ｔに
垂直である場合、磁軸Ｍが移送方向Ｔにほぼ完全に垂直に位置合わせされているとき（す
なわちθ 2＝９０°）、 （軸Ａ 1を参照）に沿って配置される位置合わ
せ素子３１によって書き込まれる位置合わせ遷移部３３は互いに同一直線上にある。
【００３４】
　図９および図１０では、位置合わせ素子３１は、約１０．０μｍ～約３００．０μｍ長
の長さＬ 2を有することができる。実際の長さＬ 2は応用形態に依存し、媒体２０上に書き
込まれる位置合わせ遷移部３３のための所望のサイズに依存する。具体的には、長さＬ 2

は、以下に説明されるように、位置合わせ遷移部３３を読み取るための読取り変換器の能
力によって決定される場合がある。位置合わせ素子３１の長さＬ 2は同じである必要はな
い、すなわち、図９および図１０に示される２つの位置合わせ素子３１は、異なる長さＬ

2を有することができる。長さＬ 2は、位置合わせ遷移部３３がサイズおよび形状が均一
ように、全ての位置合わせ素子３ 一であることが好ましい。さらに、読取りヘ

ッド上の読取り変換器は、以下に説明されるように、位置合わせ遷移部を読み取るために
問題のないサイズにすることができる。
【００３５】
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　位置合わせ素子３１は、１．０μｍ未満の線幅Ｗ 2（すなわち、Ｗ 2＜１．０μｍ）を有
することができるか、あるいは位置合わせ素子３１は、１．０μｍ以上の線幅Ｗ 2（すな
わち、Ｗ 2≧１．０μｍ）を有することができる。
【００３６】
　本発明の一実施形態では、書込み素子４１は、図９および図１０に示されるように、第
１の線幅Ｗ 1と第１の長さＬ 1とを有する。位置合わせ素子３１の線幅Ｗ 2は、書込み素子
４１の第１の線幅Ｗ 1以下である（すなわち、Ｗ 2≦Ｗ 1）。別の実施形態では、第１の線
幅Ｗ 1は、１．０μｍ未満（すなわち、Ｗ 1＜１．０μｍ）にすることができるか、第１の
線幅Ｗ 1は、１．０μｍ以上（すなわち、Ｗ 1≧１．０μｍ）にすることができる。書込み
素子４１は、約１０．０μｍ～約３００．０μｍ長である第１の長さＬ 1を有することが
できる。また図９および図１０は、第１の可変のピッチ（Ｐ 1、Ｐ 2）が、１つの位置合わ
せ素子３１の上端から別の位置合わせ素子３１の下端まで測定することができることをも
示す。
【００３７】
　位置合わせ素子３１および書込み素子４１は、当分野においてよく知られているフォト
リソグラフィ技術を用いて、テープヘッド１０上に形成することができる。たとえば、薄
膜の磁気抵抗テープヘッド用の読取り変換器および書込み変換器を形成するために、フォ
トリソグラフィを用いることが、当分野においてよく知られている。
【００３８】
　位置合わせ素子３１および書込み素子４１を形成するためにフォトリソグラフィを用い
ることに対する利点は、フォトリソグラフィによる精度で、互いに、かつ磁軸Ｍに対して
位置合わせ素子３１および書込み素子４１を配置することができることを含む。結果とし
て、第１の固定された向きＯ 1は、高精度で決定することができる。たとえば、第１の固
定された向きＯ 1は、位置合わせ素子３１の場合に９０°に、書込み素子４１の場合に４
５°に設定することができる。ＣＡＤ装置を用いて、パターン（すなわち形状）、サイズ
（すなわち幅および高さ）を電子工学的に描き、位置合わせ素子３１および書込み素子４
１の場所を決定することができる。たとえば、磁軸Ｍは、所定の線（磁軸Ｍ）に対する位
置合わせ素子３１および書込み素子４１の位置および向きを決定するＣＡＤレイアウトに
おいて、予め決められた線にすることができる。それゆえ、図９および図１０では、位置
合わせ素子３１は、同一直線上にあるか（図９参照）、平行であるか（図１０参照）、あ
るいは磁軸Ｍに対してどの角度にも向けられるように、配置することができる。
【００３９】
　したがって、図１１ ａおよび図１１ ｂでは、テープヘッド１０は、互いに平行では
ない相対する辺１２および１４を有する多角形状を有する（すなわち、テープヘッド１０
は長方形ではない）。移送方向Ｔに垂直に見えるように辺１４を位置合わせすることを試
みても、この位置合わせ技術 は、磁軸Ｍが辺１４に平行であることを想定しており、こ
こで辺１４が平行ではないので、ヘッド対媒体角θは移送方向Ｔに垂直にはならないであ
ろう。同様に、媒体２０の相対するエッジ２１および２３に平行に見えるように辺１２を
位置合わせすることを試みても、磁軸Ｍが辺１２に垂直であることが想定されており、こ
こで 辺１２ 直ではないので、ヘッド対媒体角θは移送方向Ｔに垂直にはなら
ないであろう。それゆえ、本発明の位置合わせ素子３１は、テープヘッドの辺とその磁軸
との間の想定された関係に基づく従来の技術を改善する。結果として、図１１ ａおよび
図１１ ｂでは、テープヘッド１０の形状が不均一であることに関係なく、テープヘッド
１０を調整して（５０）ヘッド対媒体角θが移送方向Ｔに垂直になるまで、位置合わせ遷
移部３３を観測することができる。
【００４０】
　さらに、磁軸Ｍと移送方向Ｔとの間の位置合わせが

で、テープヘッド１０が互
いに平行な辺１２および１４を有し、磁軸Ｍが辺１４に平行ではなく、かつ／または辺１
２に垂直ではない場合でも、本発明の原理によれば、磁軸Ｍが移送方向Ｔと位置合わせさ
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れるであろう。第１の固定された向きＯ 1は、テープヘッド１０の製造中に確立されるの
で、位置合わせ遷移部３３の記録された向きΔは、移送方向Ｔに対する書込み素子４１の
向きと、移送方向Ｔに対する書き込まれた遷移部４３の向きとの正確な指示子になる。
【００４１】
　本発明の一実施形態では、位置合わせ遷移部３３の記録された向きΔは、位置合わせ遷
移部３３が媒体２０の少なくとも一部に書き込まれた後に、磁気的に反応する材料（図示
せず）を媒体２０に塗着することにより観測される。磁気的に反応する材料は、位置合わ
せ遷移部３３がこの磁気的に反応する材料によって視認可能にされるように、媒体２０の
位置合わせ遷移部３３を有する部分に塗着される。一旦、視認可能にされたなら、位置合
わせ遷移部３３の向きを基準点と比較することができる。たとえば、相対するテープエッ
ジ（２１、２３）あるいは移送方向Ｔを基準点として用いることができる。媒体２０の幅
および位置合わせ遷移部３３のサイズに 位置合わせ遷移部３３を視認し、それ
を基準点に対して比較するために、拡大装置を用いることが必要とされる場合がある。た
とえば、所望の記録された向きΔが相対するテープエッジ（２１、２３）に垂直である場
合には、位置合わせ遷移部３３は、そ に垂直になるはずである。位置合わせ遷移
部３３が垂直でない場合には、ヘッド対媒体角θが、記録された向きΔが相対するエッジ
（２１、２３）および／または移送方向Ｔに垂直に位置合わせされるように計算どおりに
調整される。上記のプロセスは、記録された向きΔが相対するテープエッジ（２１、２３
）に垂直になるまで繰り返すことができる。磁気的に反応する材料は、限定はしないが、
たとえば、強磁性粒子および磁性流体を含む。磁性流体を用いて、媒体２０の一部をコー
ティングし、位置合わせ遷移部３３を視認可能にすることが好ましい。
【００４２】
　本発明の別の実施形態では、図１２に示されるように、位置合わせ遷移部３３は、第１
の電気信号Ｓ 1（破線で示される）を読み取るように構成される第１の読取り素子４０（
２つが示される）を有する個別の読取りヘッド６０によって観測される。読取りヘッド６
０は媒体２０と接触し（その接触は直接的であっても、非常に接近していてもよい）、第
１の電気信号Ｓ 1は、媒体２０が移送方向Ｔに読取りヘッド６０を横切って移送されるの
に応じて、第１の読取り素子４０上を通過する位置合わせ遷移部３３によって生成される
。ヘッド対媒体角θは、第１の電気信号Ｓ 1が、記録された向きΔが移送方向Ｔに対して
好ましい位置合わせを有することを示す所定のシグネチャ（電気的あるいは電子的）と一
致するまで、調整される（５０）。結果として、所定のシグネチャは、書込み素子４１が
移送方向Ｔに対する好ましい向きβを有することも指示する。第１の電気信号Ｓ 1は、た
とえば、読取りヘッド６０と電気的に通信できるオシロスコープのような信号測定装置の
画面８０上で観測することができる。図１２では、第１の電気信号Ｓ 1は、オシロスコー
プ（図示せず）の画面８０のチャネル１　ＣＨ１上で観測される。画面８０は、ｘ軸Ｘ上
で時間を、ｙ軸Ｙ上で第１の電気信号Ｓ 1の振幅Ａｍｐ１を示す。振幅Ａｍｐ１には、た
とえば、第１の読取り素子４０によって生成される読取り電流の測定値を用いることがで
きる。第１の電気信号Ｓ 1はローレンツの分布を有することができ、ピーク検出を用いて
、第１の電気信号Ｓ 1のピーク振幅ＰＡ 1が所定のシグネチャと一致するか否かを判定する
ことができる。
【００４３】
　本発明のさらに別の実施形態では、読取りヘッド６０は、近接する位置合わせバンド３
５内の位置合わせ遷移部３３によって生成される第２の電気信号Ｓ 2（破線で示される）
を読み取るように構成される少なくとも１つの第２の読取り素子４０を備えることができ
る。ヘッド対媒体角θは、第１および第２の電気信号（Ｓ 1およびＳ 2）が所定のシグネチ
ャと一致するまで調整される（５０）。上記のように、所定のシグネチャは、書込み素子
４１が移送方向Ｔに対して好ましい向きβを有することも示す。第１および第２の電気信
号（Ｓ 1およびＳ 2）は、たとえば、画面８０上で観測することができる。図１２では、第
１の電気信号Ｓ 1は、チャネル１　ＣＨ１上で観測され、第２の電気信号Ｓ 2は、チャネル
２　ＣＨ２上で観測される。所定のシグネチャには、第１の電気信号Ｓ 1のピーク振幅Ｐ
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Ａ 1と、許容可能な範囲Ｄ T内に概ね時間的に同期して生じる第２の電気信号Ｓ 2のピーク
振幅ＰＡ 2とを用いることができる。たとえば、第１および第２の電気信号（Ｓ 1およびＳ

2）は、ローレンツの分布を有することができ、ピーク検出を用いて、ピーク振幅（ＰＡ 1

およびＰＡ 2）が所定のシグネチャと一致するか否かを判定することができる。
【００４４】
　理想的には、位置合わせ遷移部３３が互いに同一直線上にあり、記録された向きΔが軸
Ｃによって示されるような移送方向Ｔとの好ましい位置合わせ状態（Δ＝９０°）を有す
るとき、ピーク振幅ＰＡ 1およびＰＡ 2は、図１２に示されるように、概ね同期して生じる
であろう。しかしながら、第１および第２の電気信号（Ｓ 1およびＳ 2）のピーク振幅ＰＡ

1およびＰＡ 2は、許容可能な範囲Ｄ Tによって示されるような許容可能な時間窓内に生じ
ることができる。
【００４５】
　一方、位置合わせ遷移部３３が、Δ  ≠９０°のように互いに同一直線上にないとき（
図７ a参照）、第１および第２の電気信号（Ｓ 1およびＳ 2）のピーク振幅ＰＡ 1およびＰＡ

2は、ＰＡ 1がＰＡ 2の前あるいは後に生じるように、あるいはその逆になるように、互い
に対して時間的にシフトされるであろう。あらゆる場合に、その時間シフトが許容可能で
ある度合いは応用形態に依存し、許容可能な範囲Ｄ Tは、所与の応用形態の場合に許容可
能である時間シフトを規定する時間差である。
【００４６】
　好ましい位置合わせは移送方向Ｔに垂直である（すなわち、図１２において、記録され
た向きΔ＝９０°）であるが、好ましい位置合わせは、移送方向Ｔに対して９０°である
必要はない。上記のように、記録された向きΔのための他の角度でも、好ましい位置合わ
せのための条件を満たすことができる。さらに、図１２に示される方法以外の方法を用い
て、位置合わせ遷移部３３を観測できることが、当業者には理解されよう。たとえば、信
号をコンピュータ（ＣＰＵ）あるいはＤＳＰによって処理できるように、信号をデジタル
領域に変換する（たとえば、デジタル／アナログコンバータを用いて）ために、第１およ
び／または第２の電気信号（Ｓ 1およびＳ 2）をシステムに接続することができる。ＣＰＵ
／ＤＳＰ上で実行されるアルゴリズムが、第１の電気信号Ｓ 1および／または第２の電気
信号Ｓ 2が所定のシグネチャと一致する時点を判定することができる。システムからの出
力信号を用いて、所定のシグネチャと一致するまで、ヘッド対媒体角θを調整することが
できる（５０）。テープヘッド１０は、フィールド交換可能ユニット（ＦＲＵ）（図示せ
ず）等に取り付けることができる。システムからの出力信号を用いて、ＦＲＵあるいはテ
ープヘッド１０に接続され、ＦＲＵあるいはテープヘッド１０の方位角を調整するように
構成される精密アクチュエータを制御することができる。たとえば、精密アクチュエータ
には、ステッパモータ、あるいは微細機械式アクチュエータ等を用いることができる。移
送方向Ｔに対してテープヘッド１０を調整する（５０）ための別の方法は、所定のシグネ
チャがシステムによって一致され まで、あるいは図１２に示されるような画面上で視覚
的に観測されるまで、精密マイクロメータを用いて、テープヘッド１０の方位角を手動で
調整することであろう。さらに、第１および第２の電気信号（Ｓ 1およびＳ 2）をシステム
によって処理して、移送方向Ｔを横切る方向Ｚにテープヘッド１０を移動させることがで
きる。その移動を用いて、テープヘッド１０を媒体２０上の中央に配置 かつ
／または読取り素子４０上に中心がくるように位置合わせバンド３５を配置することがで
きる。
【００４７】
　ここで図１７を参照すると、テープヘッド１０は、位置合わせ素子３１および書込み素
子４１と一体に形成される少なくとも１つの読取り素子５１（３つが示される）を備える
。各読取り素子５１は、位置合わせ素子３１の選択された１つと対をなし、位置合わせさ
れる（破線Ａ´を参照）。位置合わせ遷移部３３が媒体２０（図示せず）上に書き込まれ
る際に、媒体２０が移送方向Ｔにテープヘッド１０を横切って移送されるのに応じて、位
置合わせ遷移部３３が読取り素子５１上を通過するように、読取り素子５１は位置合わせ
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素子３１の下流に配置される。読取り素子５１は、位置合わせ遷移部３３が読取り素子５
１上を通過する際に、位置合わせ遷移部３３に応答して読取り信号（図示せず）を生成す
るように構成される変換器である。読取り素子５１からの読取り信号は、読取り信号の大
きさが、位置合わせ遷移部３３が良好に書き込まれたこと 否かを判定するために
解析される。
【００４８】
　それゆえ、読取り信号を用いて、書き込まれた位置合わせ遷移部３３の有効性をモニタ
することができる。位置合わせ素子３１に供給される書込み電流が、結果として、位置合
わせ遷移部３３が図１２の第１および第２の読取り素子４０によって容易に検出されるよ
うにする磁界の生成には不十分である場合には、各読取り素子５１からの読取り信号の大
きさをモニタし、それを用いて、対をなす位置合わせ素子３１に供給される書込み電流を
増加することができる。たとえば、読取りヘッド６０によって、位置合わせ遷移部３３が
容易に検出されない場合には、正確な位置合わせを達成するのが困難である場合がある。
それゆえ、正確な位置合わせを容易にするために、位置合わせ遷移部３３が媒体２０上に
良好に書き込まれるようにすることが望ましい。読取り信号の大きさは、図１２を参照し
て先に記載されたオシロスコープを用いてモニタすることができ、書込み電流は、読取り
信号が、位置合わせ遷移部３３が良好に書き込まれたこと で、増加させることが
できる。上記のようなＣＰＵあるいはＤＳＰを含むシステムを用いて、読取り信号をモニ
タし、かつ位置合わせ素子に供給される書込み電流を制御することができる。読取り信号
の大きさが、位置合わせ遷移部３３が良好に書き込まれたこと い場合には、適切
なレベルまで書込み電流を増加させることができる。
【００４９】
　上記の実施形態では、書込み素子４１を好ましい向きβに位置合わせすることに関連し
て、位置合わせ素子３１および位置合わせ遷移部３３が説明された。しかしながら、本発
明の位置合わせ素子３１は、テープヘッドを、テープヘッドを横切って移送される媒体の
移送方向に位置合わせする必要がある状況に適用することができる。
【００５０】
　さらに、位置合わせ遷移部３３が他に用いるために予め指定されている領域Ａを占有し
ない上記の実施形態とは対照的に、位置合わせ素子３１は、位置合わせ遷移部３３が図１
８のｂに示されるように、領域Ａを占有するように配置することができる。
【００５１】
　ここで図１８ ａを参照すると、媒体２０は、位置合わせバンド３５内に書き込まれた
位置合わせ遷移部３３を有する。ヘッド対媒体角θは、記録された向きΔが移送方向Ｔに
対して好ま 置合わ まで、調整することができる（５０）。図１２の読取り
ヘッド６０を用いてテープヘッド１０を位置合わせするプロセス、あるいは磁気的に反応
する材料の塗着を用いて、位置合わせ遷移部３３が確実に好ましい位置合わせ状態を有す
るようにすることができる。図１８ ａでは、好ましい位置合わせは、記録された向きΔ
が９０°である時点である。結果として、位置合わせ遷移部３３は、好ましい位置合わせ
状態で媒体２０上に予め記録される。
【００５２】
　ここで図１８ ｂを参照すると、図１８ ａの媒体２０が、その後、移送方向Ｄにデー
タヘッド７０を横切って移送される。移送方向Ｄは、図１８ ｂに示されるように、左か
ら右であるか、あるいはその逆にすることができる。データヘッド７０は、位置合わせ遷
移部３３がデータ素子８１上を通過するのに応答して、データ信号Ｓ 1およびＳ 2を生成す
るように構成される複数のデータ素子８１（２つが示される）を備える。データ素子８１
は、磁軸Ｍ´に沿って形成される。データヘッド７０には、たとえば、サーボ読取り／書
込みヘッドを用いることができる。
【００５３】
　データヘッド７０間の正確な位置合わせは、データ信号Ｓ 1およびＳ 2が、データヘッド
７０が移送方向Ｄに対して好ましい方位角を有することを示すシグネチャと一致するまで
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、磁軸Ｍ´と移送方向Ｄとの間のデータヘッド対媒体角Ψを調整する（５５）ことにより
得られる。好ましい方位角は、磁軸Ｍ´が移送方向Ｄに垂直になる（Ψ＝９０°）時点で
あることが好ましい。
【００５４】
　データヘッド７０は、磁軸Ｍ´に沿って形成される少なくとも１つの書込み素子（図示
せず）を備えることができる。データヘッド７０が移送方向Ｄに対して好ましい方位角Ψ
を有するとき、書込み素子およびデータ素子８１はいずれも、移送方向Ｄと位置合わせさ
れる（すなわち、図５の書込み素子４１の好ましい向きβと同様）。
【００５５】
　図１２を参照して先に記載された方法を用いて、データ信号（Ｓ 1およびＳ 2）を解析し
、シグネチャが一致するまで方位角を調整することができる（５５）。一旦、方位角の調
整が完了すれば、データ素子８１は、新しいデータで位置合わせ遷移部３ 書きする
ことができる。サーボライタの応用形態では、書込み素子４１ き込まれた遷移部

、データヘッド７０のサーボ素子９１によって読み取られ、横断方向Ｚ´にあるデータ
ヘッド７０を移送方向Ｄに移動するために用いることができるサーボコードを含む。デー
タヘッド７０の移動を用いて、データ素子８１を、各データバンドＡ上に配置することが
できる。データ素子８１は、２つあるいはそれ以上のデータ素子が１つデータバンドＡ内
の１つの位置合わせ遷移部３３を読み取るように配置することができるか（図１８ ｂを
参照）、あるいはデータ素子８１は、データ素子８１が、個別のデータバンドＡ内の位置
合わせ遷移部３３を読み取るように配置することができる（図１２の読取りヘッド６０の
場合に示された構成と同様）。いずれの場合でも、データ素子８１によって、２点の測定
が行われる。第１の場合には（図１８ ｂ）、データ素子８１は、同じ位置合わせ遷移部
３３からの２点を検出する。第２の場合には（図１２と同様）、データ素子８１は、デー
タヘッド７０の上端および下端において、データバンドＡ内に配置される個別の位置合わ
せ遷移部３３からの２点を検出する。横断方向Ｚ´におけるデータヘッド７０の移動を用
いて、媒体２０の幅Ｗ（図４を参照） 下にデータヘッド７０を移動させ、種々のデー
タバンドＡからデータを読み取るために、データ素子８１を配置することができる。サー
ボ素子９１はデータ素子８１と 位置合わせされるので、移送方向Ｄに対するデータ素
子８１の位置合わせによって、サーボ素子９１も移送方向Ｄに対して位置合わせされる。
【００５６】
　本発明の原理は、データヘッドを媒体の移送方 位置合わせするためにも適用するこ
とができる。たとえば、データヘッドは、媒体からのデータを格納および検索するために
用いられる媒体ドライブ内の構成要素にすることができる。媒体ドライブは、たとえば、
コンピュータあるいはネットワークと接続することができる。媒体に対するデータヘッド
の位置合わせは、本発明の位置合わせ遷移部３３を用いて達成される。
【００５７】
　したがって、図１８ ａにも示される、本発明の別の実施形態では、位置合わせ遷移部
３３は、図１８を参照して先に記載されたように、１つあるいは複数の位置合わせバンド
３５において、好ましい位置合わせ状態で媒体２０上に予め記録される（この実施形態を
例示するために、書込み素子４１およびその対応する書込み遷移部４３ならびに書込みバ
ンド４５は無視されることになる）。
【００５８】
　図１８ ｂでは、媒体２０は、予め記録された位置合わせ遷移部３３を備えており、磁
軸Ｍ´上に位置合わせされるデータ素子８１（２つが示される）を含むデータヘッド７０
を横切って移送される。位置合わせバンド３５の位置は、データあるいはサーボコード記
憶のような他の目的で使用するために予め指定されている領域Ａに対応することができる
。データ素子８１は、領域Ａ内のデータの読出しおよび／または書込みを行うことができ
る。データ素子８１は、位置合わせ遷移部３３がデータ素子８１上を通過するのに応答し
て、データ信号Ｓ 1およびＳ 2を生成するように構成される。データ信号（Ｓ 1およびＳ 2）
の一方あるいは両方が、データヘッド７０と接続される方位角制御ユニット（図示せず）
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によって受信される。方位角制御ユニットは、磁軸Ｍ´と移送方向Ｄとの間のデータヘッ
ド対媒体角Ψを調整する（５５）ように動作する。
【００５９】
　データヘッド７０と移送方向Ｄとの間の正確な位置合わせは、データ信号（Ｓ 1および
Ｓ 2）の一方あるいは両方が、データヘッド７０が移送方向Ｄに対する好ましい方位角を
有することを示すデータシグネチャと一致するまで、データヘッド対媒体角Ψを調整する
（５５）ことにより得られる。好ましい方位角は、磁軸Ｍ´が移送方向Ｄに垂直になる時
点である（Ψ＝９０°）ことが好ましい。方位角を良好に調整した（５５）後に、位置合
わせ遷移部３３は、データ素子８１によって上書きすることができる。たとえば、データ
素子８１は、データヘッド７０に供給されるデータ電流に応答して磁界を生成することが
できる。磁界は、１つあるいは複数のデータ遷移部（図示せず）で、位置合わせ遷移部３
３のいくつかあるいは全てを上書きするように作用する。領域Ａがサーボコードのために
指定される場合には、位置合わせ遷移部３３を上書きすることはオプションではなくなる
であろう。代わりに、媒体２０を、１回あるいは定期的な位置合わせのメンテナンスの一
部として用いることができ、そのメンテナンスでは、媒体２０を含むカートリッジにより
、領域Ａ内の位置合わせ遷移部３３を用いてデータヘッド７０を位置合わせする。位置合
わせをした後、そのカートリッジは取り出され、領域Ａ内に予め記録されたサーボコード
を有する媒体２０を含むカートリッジによって置き換えられる。
【００６０】
　さらに、データ信号（Ｓ 1およびＳ 2）を個別に、あるいは組み合わせて用いて、横断方
向Ｚ´にあるデータヘッド７０を移送方向Ｄに移動させ、データヘッド７０を媒体２０上
の中央に、かつ／またはデータ素子８１を各バンド（領域Ａ）上の中央に配置することが
できる。上記のように、データ信号（Ｓ 1およびＳ 2）を受信する制御システムを用いて、
方位角を調整し（５５）、横断方向Ｚにあるデータヘッド７０を移動させることができる
。
【００６１】
　図１８ ｂを参照して先に記載された実施形態では、データ信号（Ｓ 1およびＳ 2）は、
図１２を参照して先に記載されたようなＣＰＵ／ＤＳＰを用いて処理することができる。
同様に、データヘッド対媒体角Ψに対する調整および横断方向 ータヘッド７０の
移動は、図１２を参照して先に記載されたような、アクチュエータ、モータ等を用いて達
成することができる。
【００６２】
　図１３に示されるように、本発明の一実施形態では、テープヘッド１０は、磁軸Ｍの第
１の端部７７に配置され、少なくとも１つの水平素子６１（６つが示される）を含む第１
の全体位置合わせパターン６３と、磁軸Ｍの第２の端部７９に配置され、少なくとも１つ
の水平素子６１（６つが示される）を含む第２の全体位置合わせパターン６５とを含む。
水平素子６１は位置合わせ素子３１および書込み素子４１と一体に形成され、各水平素子
６１は、磁軸Ｍに対する第２の固定された向きＯ 2を有する。第２の固定された向きＯ 2は
、磁軸に垂直であることが好ましい。水平素子６１は位置合わせ素子３１および書込み素
子４１と一体に形成されるので、第２の固定された向きＯ 2は、位置合わせ素子３１およ
び書込み素子４１を参照して先に記載されたように、フォトリソグラフィによる精度で設
定することができる。
【００６３】
　図１４および図１５を参照すると、媒体２０が移送方向Ｔにテープヘッド１０を横切っ
て移送される際に、相対するエッジ２１が第１の全体位置合わせパターン６３に近接し、
水平素子６１ａが、相対するエッジ２１の外側で視認可能になる。同様に、相対するエッ
ジ２３が第２の全体位置合わせパターン６５に近接し、水平素子６１ｂが、相対するエッ
ジ２３の外側で視認可能になる。磁軸Ｍと移送方向Ｔとの間の全体的な視認による位置合
わせは、水平素子（６１ａ、６１ｂ）の一方あるいは両方が各相対するエッジ（２１、２
３）に平行になるまで、ヘッド対媒体角θを調整する（５０）ことにより得られる。
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【００６４】
　図１４では、水平素子（６１ａ、６１ｂ）は、相対するエッジ（２１、２３）と破線６
７ａおよび６７ｂとの間の角度δによって示されるように、各相対するエッジ（２１、２
３）に平行ではない。しかしながら、図１５では、ヘッド対媒体角θを調整した後に（５
０）、水平素子（６１ａ、６１ｂ）の両方が、破線６７ａおよび６７ｂによって示される
ように、相対するエッジ（２１、２３）に平行である。位置合わせが視認可能な位置合わ
せであるので、水平素子（６１ａ、６１ｂ）と、相対するエッジ（２１、２３）との間の
平行な関係は、全体的な関係である。好ましい向きβは移送方向Ｔとほぼ完全に垂直な位
置合わせ状態にはなく、角度β´によって示されるように、書込み素子４１が移送方向Ｔ
と概ね垂直な位置合わせ状態にある。
【００６５】
　水平素子６１がミクロンあるいはサブミクロンの機構サイズを有する場合には、たとえ
ば、マイクロスコープあるいはボアスコープのような光学的な拡大装置を用いて、相対す
るエッジ（２１、２３）を参照して水平素子６１を観測することが必要とされる場合があ
る。全体的な視認による位置合わせは、機械による視認およびパターン認識を用いて全体
的な視認による位置合わせを達成することを含む、手動、あるいは自動化された方法で達
成することができる。ヘッド対媒体角θの調整５０は、先に説明したように、テープヘッ
ド１０あるいはＦＲＵを移動させることにより達成することができる。テープヘッド１０
の全体的な視認による位置合わせの後、テープヘッド１０は、視認可能な水平素子を隠す
ために、上下に（矢印Ｖを参照）テープヘッド１０を移動させることにより再配置するこ
とができる。上下方向への移動Ｖは、全体的な視認による位置合わせによって達成された
相対するエッジ（２１、２３）に平行な関係を保持する。
【００６６】
　ここで図１６ ａおよび図１６ ｂを参照すると、水平素子６１および８１が、第２の
可変のピッチ（Ｐ 3、Ｐ 4）だけ離隔して配置される。第２の可変のピッチ（Ｐ 3、Ｐ 4）は
、約２０．０μｍ～約２００．０μｍの範囲内にすることができる。好ましい実施形態で
は、第２の可変のピッチ（Ｐ 3、Ｐ 4）は互いに等しい（すなわちＰ 3＝Ｐ 4）。しかしなが
ら、第２の可変のピッチ（Ｐ 3、Ｐ 4）は、図１６ ｂに示されるように等しい必要はなく
、ピッチＰ 3をピッチＰ 4より大きくすることができる。水平素子６１は、図１６ ａのよ
うに磁軸Ｍ の側に対をなすように配列することができるか、あるいは水平素子８１
は、図１６ ｂのような磁軸Ｍに沿って対称に配列することができる。
【００６７】
　水平素子（６１、８１）は高さＨ 1を有する。本発明の一実施形態では、高さＨ 1は、１
．０μｍ未満である（すなわち、Ｈ 1＜１．０μｍ）。別の実施形態では、高さＨ 1は、１
．０μｍ以上である（すなわち、Ｈ 1≧１．０μｍ）。水平素子（６１、８１）のための
高さＨ 1は、全ての水平素子の場合に同じであることが好ましい。しかしながら、高さＨ 1

は、水平素子（６１、８１）の中で変更することができる。水平素子（６１、８１）は、
全ての水平素子（６１、８１）の場合に同じであることができるか、水平素子（６１、８
１）の中で変更することができる幅Ｗ Hを有する。幅Ｗ Hは、約５０μｍ～約１．０ｍｍ幅
の範囲内にあることが好ましい。
【００６８】
　図１４、図１５、図１６ ａおよび図１６ ｂに示されるように、本発明の一実施形態
では、第１および第２の全体位置合わせパターン（６３、６５）は、水平素子６１と一体
に形成され、磁軸Ｍと同一直線上にある垂直素子７１を備える。垂直素子７１がいずれも
、移送方向Ｔに対する磁軸Ｍの場所の正確な視認可能な指示子として機能するように、第
１の全体位置合わせパターン６３内の垂直素子７１の少なくとも一部が相対するエッジ２
１の外側で視認可能であり、第２の全体位置合わせパターン６５内の垂直素子７１の少な
くとも一部が相対するエッジ２３の外側で視認可能である。磁軸Ｍと移送方向Ｔとの間の
全体的な視認による位置合わせは、水平素子６１の一方あるいは両方が各相対するエッジ
（２１、２３）に平行であり、かつ垂直素子７１の一方あるいは両方が各相対するエッジ
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（２１、２３）との好ましいエッジ向きφを有するまで、ヘッド対媒体角θを調整するこ
と（５０）により得られる。好ましいエッジ向きφは、相対するエッジ（２１、２３）に
垂直であることが好ましい。
【００６９】
　図１５に示されるように、本発明の別の実施形態では、相対するエッジ（２１、２３）
の外側で視認することができる水平素子６１は、テープヘッド１０を視覚的に媒体２０上
の中央に配置するために用いられる。先に記載したように、水平素子６１を用いて、テー
プヘッド１０の全体的な視認による位置合わせを行った後、相対するエッジ（２１、２３
）に対する平行な関係が保持されるように、テープヘッド１０を上下に移動させることが
でき（Ｖ）、相対するエッジ２１とテープヘッド１０の上端との間の距離がおおむねＤ１
になるように、かつ相対するエッジ２３とテープヘッド１０の下端との間の距離が概ねＤ
２になるように、テープヘッド１０を視覚的に媒体２０上の中央に配置することができる
。それゆえ、テープヘッド１０が媒体２０に対して対称的に中央に配置されることになる
場合には、Ｄ１＝Ｄ２である。一方、テープヘッド１０が媒体２０に対して対称ではない
場合には、Ｄ１およびＤ２は、互いに概ね等しくならなくてもよく、Ｄ１およびＤ２の値
は応用形態に依存するであろう。
【００７０】
　さらに、上記の実施形態が垂直素子７１を含む場合には、垂直素子７１を用いて、テー
プヘッド１０の磁軸Ｍが確実に、各相対するエッジ（２１、２３）に対する好ましいエッ
ジ向きφを有するようにすることができる。たとえば、好ましいエッジ向きφ＝９０°で
あり、水平素子（６１ａ、６１ｂ）が相対するエッジ（２１、２３）に平行であるとき、
テープヘッド１０を上下に移動させ（Ｖ）、媒体２０上の中央に配置することができる。
水平素子６１は、全体的な視覚による位置合わせ中に、相対するエッジ（２１、２３）の
外側でもっぱら視認可能である必要がある。その後、テープヘッド１０を上下に移動させ
（Ｖ）、水平素子６１を媒体２０の背後に隠すことができる。
【００７１】
　テープヘッド１０を媒体２０上の中央に配置することの利点は、媒体２０上 移部（
３３、４３）を書き込む前に、媒体２０に対する書込み素子４１および位置合わせ素子３
１の近似的な位置がわかるように、テープヘッド１０を最初に視覚的に中央に配置
ことを含む。
【００７２】
　図１６ ａを参照すると、垂直素子７１は、線幅Ｗ Vおよび高さＨ Vを有する。線幅Ｗ V

は、約０．５μｍ～約３．０μｍ幅にすることができる。高さＨ Vは、約２０．０μｍ～
約２００．０μｍにすることができる。本発明の一実施形態では、垂直素子７１の線幅Ｗ

Vは、位置合わせ素子３１の線幅Ｗ 2以上である（図９および図１０を参照）（すなわち、
Ｗ V≧Ｗ 2）。
【００７３】
　垂直素子７１を用いることの１つの利点は、それらの素子が位置合わせ素子３１および
書込み素子４１と一体に形成され、磁軸Ｍと同一直線上にあることである。結果として、
移送方向Ｔに対する書込み素子の改善された全体的な位置合わせが可能となる。なぜなら
、垂直素子７１が、テープヘッド１０と、媒体２０の相対するエッジ（２１、２３）とに
対して磁軸Ｍの場所のための正確な視認マーカとして機能するためである。それゆえ、本
発明の全体的な視認による位置合わせは、テープヘッドの形状に依存せず、テープヘッド
が製造された後にテープヘッド上に形成される不正確な視認可能な指示子より優れている
。
【００７４】
　垂直素子７１および水平素子６１を個別に、あるいは組み合わせて用いて、テープヘッ
ド１０の全体的な視認による位置合わせを達成することができる。手動あるいは自動化さ
れた手段により、上記のような垂直素子７１および／または水平素子６１を用いて全体的
な視認による位置合わせを実行することができる。
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【００７５】
　本発明の別の実施形態では、テープヘッド１０の全体的な位置合わせは、以下に記載さ
れるように水平素子６１を用いて達成される（図１３、図１４および図１５を参照）。水
平素子６１は、磁軸Ｍのそれぞれ第１および第２の端部（７７、７９）に配置される第１
および第２の全体位置合わせパターン（６３、６５）に含まれる。水平素子６１は書込み
素子４１と一体に形成される。しかしながら、図１３、図１４、および図１５に示される
ような位置合わせ素子３１は、全体的な視認による位置合わせのみが望まれているので、
この実施形態には含まれない。移送方向Ｔに対する書込み素子４１の全体的な視認による
位置合わせは、先に記載されたのと同じようにして達成される。上記のような垂直素子７
１は、個別に、あるいは水平素子６１と組み合わせて、全体的な視認による位置合わせを
達成するために、この実施形態に含まれることができる。垂直素子７１のための好ましい
エッジ向きφは、相対するエッジ（２１、２３）に垂直である。図１６ ａおよび図１６

ｂを参照して先に記載されたような寸法（幅、高さおよび長さ）は、上記の実施形態に
も当てはまる。
【００７６】
　水平素子６１および垂直素子７１は、位置合わせ素子３１および書込み素子４１を参照
して先に記載されたような書込み電流に応答して磁界を生成するように構成することがで
きる。しかしながら、水平素子６１によって媒体２０上に書き込まれる任意の遷移部は、
後続の書込み電流パルスによって入れ替えられる（すなわち、上書きされる）であろう。
同様に、垂直素子７１によって媒体２０上に書き込まれる任意の遷移部は、水平素子６１
からの遷移部によって基本的には上書きされるであろう。典型的には、相対するエッジ（
２１、２３）に近いテープヘッド１０の部分は、相対するエッジ（２１、２３）において
媒体が持ち上がるため、媒体２０がテープヘッド１０を横切って移送される際に、媒体２
０と接触しない。この持ち上がりの結果、水平素子６１および垂直素子７１からの磁界が
著しく低減され、磁界強度が低すぎて媒体２０上に遷移部を良好に書き込むことができな
いので、テープ上に書き込まれる遷移部が、劣悪に画定されるか、あるいはほとんど存在
しな 媒体２０はテープヘッド１０から変動したある距離だけ離れて存在する。
【００７７】
　ここで記載されるように、位置合わせ素子３１、水平素子６１および８１、垂直素子７
１は、テープヘッドの当業者に知られている技術、および書込み素子４１および読取り素
子５１を形成するためのフォトリソグラフィを用いて形成することができる。テープヘッ
ド１０は、図３および図１７に示されるようなフェライト－ガラス－フェライト積層体か
ら形成することができ、テープヘッド１０は２つのフェライト層１１間に挟まれたガラス
層１３を備える。ガラス層１３は、素子、すなわち書込み素子４１、位置合わせ素子３１
、読取り素子５１、水平素子（６１、８１）、および垂直素子７１が一体に形成される平
坦な表面を有することが好ましい。テープヘッド１０は、一枚のフェライト－ガラス－フ
ェライト材料から一括で形成することができ、その後、鋸等を用いてそのシートから各テ
ープヘッド１０を切り出すことができる。
【００７８】
　マイクロエレクトロニクス技術においてよく知られているフォトリソグラフィプロセス
を用いて、素子のためのパターンを形成できるように、ガラス層１３のための平坦な表面
が望まれる。素子を形成する間隙は、空気、フォトレジスト、あるいはいくつかの他の非
磁性材料から形成することができる。書込み素子４１は、たとえば、ハーフシェブロンパ
ターン、フルシェブロンパターン、ハーフダイヤモンドパターン、フルダイヤモンドパタ
ーンを含む形状を有することができる（それぞれ図３ ａ、図３ ｂおよび図３ ｃを参
照されたい）がこれらに限定されない。書込み素子４１のための形状は、ここに図示およ
び記載される形状に限定されるものと解釈されるべきではなく、他の形状を用いることが
でき、応用形態、および書込み素子４１によって書き込まれる遷移部を良好に読み取るた
めの読取り変換器の能力が、書込み素子４１の形状を決定する。ガラス層１ 曲面を用
いることができるが、曲面上に素子のための均一なパターンを形成することはさらに難し
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い。さらに、曲面上に均一なパターンを形成することは、平面上のパターンを形成するた
めに必要とされるものより、複雑で、高価な装置を必要とする。本発明の素子のためのパ
ターンを形成するために、従来のフォトリソグラフィ装置を用いることができる。
【００７９】
　本発明のテープヘッド１０には、閉ループサーボヘッド、薄膜磁気抵抗ヘッド、薄膜磁
気抵抗サーボ書込みヘッド等を用いることができる。たとえば、ＬＴＯのような応用形態
の場合には、素子のための機構サイズは、ミクロンおよびサブミクロン範囲になるが、本
発明の原理は、テープヘッドの変換器素子を媒体の移送方向と位置合わせすること、ある
いはテープヘッド自体を媒体の移送方向に位置合わせすることが望まれる任意のテープヘ
ッドに当てはまる。
【００８０】
　典型的なテープヘッド１０を形成し、素子（３１、４１、５１、６１、７１および８１
）のためのパターンを形成する方法は、２０００年１月２５日に Beck等に付与された「 Ba
tch Fabricated Servo Write Head Having Low Write-Gap Linewidth Variation」という
タイトルの米国特許第６，０１８，４４４号に記載されており、その全体を参照により本
明細書に援用する。
【００８１】
　本発明を、構造的と方法的特徴に関してある程度特定的な言葉で説明したが、本明細書
に開示した手段は本発明を実施する好ましい形態を含むものであり、本発明はこれら図示
し記載された特定の特徴に制限されないことを理解されたい。したがって、本発明は、均
等の原則に従って適切に解釈される特許請求の範囲に記載された範囲内におけるいかなる
形態または変更についても含むものである。
【００８２】
　本発明は、以下に要約される。
　１．
　テープヘッド（１０）を横切って移送され、相対するエッジ（２１、２３）を有する媒
体（２０）の移送方向（Ｔ）に対して、前記テープヘッド（１０）上に書込み素子（４１
）を正確に位置合わせするための装置であって、
　前記書込み素子（４１）と一体に形成される少なくとも１つの位置合わせ素子（３１）
を備え、前記書込み素子（４１）および前記位置合わせ素子（３１）はいずれも、前記テ
ープヘッド（１０）の磁軸（Ｍ）に対して第１の固定された向きを（Ｏ 1）を有し、
　前記書込み素子（４１）および前記位置合わせ素子（３１）は、前記テープヘッドに供
給される書込み電流によって誘発される磁界を生成するように構成され、
　前記書込み素子（４１）が生成する前記磁界は、前記媒体（２０）上に複数の書込み遷
移部（４３）を書込み、それにより前記媒体（２０）上に書込みバンド（４５）を画定し
、
　前記位置合わせ素子（３１）が生成する前記磁界は、前記移送方向（Ｔ）に対して記録
された向き（Δ）を有する複数の位置合わせ遷移部（３３）を前記媒体（２０）上に書込
み、それにより前記媒体（２０）上に位置合わせバンド（３５）を画定し、
　前記正確な位置合わせは、前記位置合わせバンド（３５）内の前記位置合わせ遷移部（
３３）を観測し、前記位置合わせ遷移部（３３）の前記記録された向き（Δ）が、前記書
込み素子（４１）が前記移送方向（Ｔ）に対して好ましい向き（β）を有することを示す
まで、前記磁軸（Ｍ）と前記移送方向（Ｔ）との間のヘッド対媒体角（θ）を調整する（
５０）ことにより得られる、
ことを特徴とする装置。
　２．
　前記位置合わせ素子（３１）は、前記位置合わせ遷移部（３３）が前記書込み遷移部（
４３）と干渉せず、前記書込み遷移部（４３）を上書きもせず、かつ他に使用するために
予め指定されている前記媒体（２０）上の領域（Ａ）を占有しないように配置されること
を特徴とする第１項に記載の装置。
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　３．
　他に使用するために予め指定されている前記媒体（２０）上の前記領域（Ａ）はフォー
マット仕様に準拠することを特徴とする第２項に記載の装置。
　４．
　前記書込み遷移部（４３）は、前記媒体（２０）上に予め記録されるサーボコードを含
む １ に記載の装置。
　５．
　前記好ましい向き（β）は、前記移送方向（Ｔ）に垂直であることを特徴とする第１項
に記載の装置。
　６．
　前記ヘッド対媒体角（θ）は、前記好ましい向き（β）が前記移送方向（Ｔ）と垂直で
あるときに、９０°であることを特徴とする第５項に記載の装置。
　７．
　前記位置合わせ素子（３１）の前記第１の固定された方向（Ｏ 1）は、前記位置合わせ
素子（３１）が前記磁軸（Ｍ）に沿って位置合わせされるように、前記磁軸（Ｍ）と同一
直線上にあることを特徴とする第１項に記載の装置。
　８．
　前記位置合わせ素子（３１）の前記第１の固定された向き（Ｏ 1）は、前記磁軸（Ｍ）
に平行（Ａ 1、Ａ 2）であり、前記位置合わせ素子（３１）は、前記磁軸（Ｍ）からオフセ
ットされた位置を有することを特徴とする第１項に記載の装置。
　９．
　前記位置合わせ遷移部（３３）を観測するために、前記テープヘッド（１０）と所定の
関係で配置された個別の読取りヘッド（６０）を備え、前記読取りヘッド（６０）は、前
記媒体（２０）が前記読取りヘッド（６０）を横切って移送される際に、前記位置合わせ
バンド（３５）内に記録された前記位置合わせ遷移部（３３）から第１の読取り信号（Ｓ

1）を生成するように構成された第１の読取り素子（４０）を備え、
　前記ヘッド対媒体角（θ）は、前記第１の読取り信号（Ｓ 1）が前記記録された向き（
Δ）が前記移送方向（Ｔ）に対して好ましい位置合わせ状態を示す所定のシグネチャと一
致し、かつ、前記所定のシグネチャが前記書込み素子（４１）が前記移送方向（Ｔ）に対
して好ましい向き（β）を有するまで調整される（５０）、
ことを特徴とする第１項に記載の装置。
　１０．
　前記読取りヘッド（６０）はさらに、前記媒体（２０）が前記読取りヘッド（６０）を
横切って移送される際に、近隣の位置合わせバンド（３５）内に記録された前記位置合わ
せ遷移部（３３）から第２の読取り信号（Ｓ 2）を生成するように構成された第２の読取
り素子（４０）を備え、かつ、前記所定のシグネチャは、指定された許容範囲Ｄ T内にほ
ぼ同時に生じる前記第１の読取り信号（Ｓ 1）および前記第２の読取り信号（Ｓ 2）を有す
ることを特徴とする第９項に記載の装置。
　１１．
　少なくとも１つの水平素子（６１）を有し、前記磁軸（Ｍ）の第１の端部（７７）に配
置される第１の全体位置合わせパターン（６３）を備え、
　少なくとも１つの水平素子（６１）を有し、前記磁軸（Ｍ）の第２の端部（７９）に配
置される第２の全体位置合わせパターン（６５）を備え、
　前記第１および前記第２の全体位置合わせパターン（６３、６５）の前記水平素子（６
１）は、前記書込み素子（４１）および前記位置合わせ素子（３１）と一体に形成され、
前記各水平素子（６１）は、前記磁軸（Ｍ）に対して第２の固定された向きＯ 2を有し、
　前記媒体（２０）が前記テープヘッド（１０）を横切って移送される際に、前記相対す
るエッジ（２１、２３）のうちの第１のエッジが前記第１の全体位置合わせパターン（６
３）に近接し、前記水平素子（６１）が前記相対するエッジ（２１、２３）のうちの前記
第１のエッジの外側で視認され、また前記相対するエッジ（２１、２３）のうちの第２の
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エッジが前記第２の全体位置合わせパターン（６５）に近接し、その前記水平素子（６１
）が前記相対するエッジ（２１、２３）のうちの前記第２の端部の外側で視認され、
　前記磁軸（Ｍ）と前記移送方向（Ｔ）との間の全体視認位置合わせは、前記水平素子（
６１）が前記第１のエッジおよび前記第２のエッジで構成される前記相対するエッジ（２
１、２３）のうちの一方あるいは両方と平行になるまで、前記ヘッド対媒体角（θ）を調
整することにより得られ、前記全体視認位置合わせの後に、前記テープヘッド（１０）は
、前記視認可能な水平素子（６１）が隠れるように再配置される、
ことを特徴とする第１項に記載の装置。
　１２．
　前記各相対するエッジ（２１、２３）の外側で視認可能な前記第１および前記第２の全
体位置合わせパターン（６３、６５）内の前記水平素子（６１）は、前記媒体（２０）に
対して前記テープヘッド（１０）を視覚的に中央に配置するように、前記テープヘッド（
１０）を調整するために用いられることを特徴とする第１１項に記載の装置。
　１３．
　前記第１および前記第２の全体位置合わせパターン（６３、６５）は、
　前記磁軸（Ｍ）と同一直線上にあり、前記水平素子（６１）と一体に形成された垂直素
子（７１）を備え、
　前記第１および前記第２の全体位置合わせパターン（６３、６５）内の前記垂直素子（
７１）の少なくとも一部は、両方の前記垂直素子（７１）が、前記移送方向（Ｔ）に対す
る前記磁軸（Ｍ）の場所の正確な視認可能な指示子として機能するように前記各相対する
エッジ（２１、２３）の外側で視認することができ、かつ、前記磁軸（Ｍ）と前記移送方
向（Ｔ）との間の前記全体視認位置合わせは、前記垂直素子（７１）の一方あるいは両方
が、前記第１のエッジ（２１）あるいは前記第２のエッジ（２３）に対して好ましいエッ
ジ向き（φ）を有するまで、前記ヘッド対媒体角（θ）を調整することにより得られる、
ことを特徴とする第１１項に記載の装置。
　１４．
　前記好ましいエッジ方向（φ）は、前記相対するエッジ（２１、２３）に垂直であるこ
とを特徴とする第１３項に記載の装置。
　１５．
　前記書込み素子（４１）および前記位置合わせ素子（３１）と一体に形成される少なく
とも１つの読取り素子（５１）をさらに備え、前記読取り素子（５１）は、前記媒体（２
０）が前記移送方向（Ｔ）に前記テープヘッド（１０）を横切って移送される際に、前記
位置合わせ遷移部（３３）が前記読取り素子（５１）上を通過するように、前記位置合わ
せ素子（３１）と位置合わせされ（Ａ´）、
　前記読取り素子（５１）は、前記位置合わせ遷移部（３３）に応答して読取り信号を生
成するように構成され、
　前記読取り信号は、前記読取り信号の大きさが、前記位置合わせ遷移部（３３）が良好
に書き込まれたことを示すか否かを判定するために解析される、
ことを特徴とする第１項に記載の装置。
　１６．
　前記位置合わせ素子（３１）に対する前記書込み電流は、前記読取り信号の大きさが前
記位置合わせ遷移部（３３）が良好に書き込まれたことを示さないときに、増加すること
を特徴とする第１５項に記載の装置。
　１７．
　前記位置合わせ素子（３１）は、前記位置合わせ遷移部（３３）が他に使用するために
あらかじめ指定されている前記媒体（２０）上の領域（Ａ）を占有するように配置される
ことを特徴とする第１項に記載の装置。
　１８．
　前記媒体（２０）は移送方向Ｄに個別のデータヘッド（７０）を横切って移送され、前
記データヘッド（７０）は、前記データヘッド（７０）の磁軸（Ｍ´）に沿って形成され
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る複数のデータ素子（８１）を備え、前記データ素子（８１）はそれぞれ、前記位置合わ
せ遷移部（３３）が前記データ素子（８１）上を通過するのに応答して、データ信号を生
成するように構成され、前記位置合わせ遷移部（３３）は前記媒体（２０）上に予め記録
され、前記移送方向（Ｄ）に対して好ましい位置合わせ状態を有し、
　前記データヘッド（７０）と前記移送方向（Ｔ）との間の前記正確な位置合わせは、前
記データ素子（８１）のうちの少なくとも２つからの前記データ信号を解析し、前記デー
タ信号が、前記データヘッド（７０）が前記移送方向（Ｄ）に対して好ましい方位角を有
することを示すシグネチャと一致するまで、前記磁軸（Ｍ´）と前記移送方向（Ｄ）との
間のデータヘッド対媒体角（Ψ）を調整する（５５）ことにより得られる、
ことを特徴とする第１７項に記載の装置。
　１９．
　前記データヘッド（７０）はさらに、前記磁軸（Ｍ´）に沿って形成される少なくとも
１つの書込み素子（９１）を備え、前記書込み素子（９１）および前記データ素子（８１
）はいずれも、前記データヘッド（７０）が前記移送方向（Ｄ）に対して前記好ましい方
位角を有するときに、前記移送方向（Ｄ）と位置合わせされることを特徴とする第１８項
に記載の装置。
　２０．
　テープヘッド（１０）を横切って移送され、相対するエッジ（２１、２３）を有する媒
体（２０）の移送方向（Ｔ）に対して、前記テープヘッド（１０）の書込み素子（４１）
を全体的に視認により位置合わせするための装置であって、
　前記テープヘッド（１０）の磁軸（Ｍ）の第１の端部（７７）に配置され、少なくとも
１つの水平素子（６１）を有する第１の全体位置合わせパターン（６３）を備え、
　前記磁軸（Ｍ）の第２の端部（７９）に配置され、少なくとも１つの水平素子（６１）
を有する第２の全体位置合わせパターン（６５）を備え、
　前記第１および前記第２の全体位置合わせパターン（６３、６５）の前記水平素子（６
１）は前記書込み素子（４１）と一体に形成され、前記各水平素子（６１）は前記磁軸（
Ｍ）に対して第２の固定された向き（Ｏ 2）を有し、
　前記書き込み素子（４１）は、前記テープヘッド（１０）に供給される書込み電流によ
って誘発される磁界を生成するように構成され、前記磁界は、前記媒体（２０）上に複数
の書込み遷移部（４３）を書込み、それにより前記媒体（２０）上に書込みバンド（４５
）を画定し、
　前記媒体（２０）が前記テープヘッド（１０）を横切って移送される際に、前記相対す
るエッジ（２１、２３）のうちの第１のエッジが、前記第１の全体位置合わせパターン（
６３）に近接し、その前記水平素子（６１）は前記相対するエッジ（２１、２３）のうち
の前記第１のエッジの外側で視認可能であり、かつ、前記相対するエッジ（２１、２３）
のうちの第２のエッジが、前記第２の全体位置合わせパターン（６５）に近接し、その前
記水平素子（６１）は前記相対するエッジ（２１、２３）のうちの前記第２のエッジの外
側で視認可能であり、
　前記移送方向（Ｔ）に対する前記書込み素子（４１）の前記全体視認位置合わせは、前
記水平素子（６１）の一方あるいは両方が前記相対するエッジ（２１、２３）のうちの前
記各第１あるいは第２のエッジに平行になるまで、前記磁軸（Ｍ）と前記移送方向（Ｔ）
との間のヘッド対媒体角（θ）を調整する（５０）ことにより得られる、
ことを特徴とする装置。
　２１．
　前記第１および前記第２の全体位置合わせパターン（６３、６５）はさらに、第２の可
変のピッチ（Ｐ 3、Ｐ 4）だけ離隔して配置された複数の水平素子（６１）を備えることを
特徴とする第２０項に記載の装置。
　２２．
　前記各相対するエッジ（２１、２３）の外側で視認することができる前記第１および前
記第２の全体位置合わせパターン（６３、６５）内の前記水平素子（６１）は、前記媒体
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（２０）に対して前記テープヘッド（１０）を視覚的に中央に配置するように前記テープ
ヘッド（１０）を調整するために用いられることを特徴とする第２０項記載の装置。
　２３．
　前記第１および前記第２の全体位置合わせパターン（６３、６５）はさらに、
　前記磁軸（Ｍ）と同一直線上にあり、前記水平素子（６１）と一体に形成される垂直素
子（７１）を備え、
　前記第１および前記第２の全体位置合わせパターン（６３、６５）内の前記垂直素子（
７１）の少なくとも一部は、双方の前記垂直素子（７１）が前記移送方向（Ｔ）に対する
前記磁軸（Ｍ）の場所の正確な視認可能な指示子として機能するように、それぞれの前記
相対するエッジ（２１、２３）の外側で視認可能であり、
　前記移送方向（Ｔ）に対する前記書込み素子（４１）の前記全体視認位置合わせは、前
記垂直素子（７１）の一方あるいは両方が、前記各第１および第２のテープエッジ（２１
、２３）に対して好ましいエッジ向き（φ）を有するまで、前記ヘッド対媒体角（θ）を
調整することにより得られる、
ことを特徴とする第２０項に記載の装置。
　２４．
　前記好ましいエッジ向き（φ）は、前記相対するエッジ（２１、２３）に対して垂直で
あることを特徴とする第２３項に記載の装置。
　２５．
　データヘッド（７０）を横切って移送される媒体（２０）の移送方向（Ｄ）に対して前
記データヘッド（７０）を正確に位置合わせするために、前記データヘッド（７０）の少
なくとも１つのデータ素子（８１）を用いるための装置であって、
　前記移送方向（Ｄ）に対して好ましい位置合わせ（Δ）を有する位置合わせバンド（３
５）内の前記媒体（２０）上に予め記録される複数の位置合わせ遷移部（３３）を有し、
　前記データ素子（８１）は、前記媒体（２０）が前記移送方向（Ｄ）に前記データヘッ
ド（７０）を横切って移送される際に、前記位置合わせ遷移部（３３）が前記データ素子
（８１）上を通過するのに応答して、データ信号を生成するように構成され、
　前記データヘッド（７０）と前記移送方向（Ｄ）との間の方位角を調整する（５５）た
めの方位角制御ユニットを備え、前記方位角制御ユニットは前記データ信号を受信し、前
記データヘッド（７０）に接続され、
　前記正確な位置合わせは、前記データ信号を解析し、前記データ信号が、前記データヘ
ッド（７０）が前記移送方向（Ｄ）に対して好ましい方位角を有することを示すシグネチ
ャと一致するまで、前記データヘッド（７０）と前記移送方向（Ｄ）との間のデータヘッ
ド対媒体角（Ψ）を調整することにより得られる、
ことを特徴とする装置。
　２６．
　前記好ましい方位角は、前記移送方向（Ｄ）に垂直であることを特徴とする第２５項に
記載の装置。
　２７．
　前記データ素子（８１）は、前記データヘッド（７０）に供給されるデータ電流に応答
して磁界を生成するように構成され、前記磁界は、前記位置合わせ遷移部（３３）の少な
くとも一部を複数のデータ遷移部で上書きすることを特徴とする第２５項に記載の装置。
【図面の簡単な説明】
【図１】　ａは従来技術の視認可能な指示子を用いるテープヘッド位置合わせの位置合わ
せ前を表した図である。ｂはその位置合わせ後を表す図である。
【図２】　ａはテープの縁を用いた従来技術によるテープヘッド位置合わせの位置合わせ
前を表す図である。ｂはその位置合わせ後の図である。
【図３】　ａないしｃは、本発明による書込み素子の形状を表す図である。ｄは本発明に
よる位置合わせ素子を含むテープヘッドの外形図である。
【図４】　本発明による、媒体上への位置合わせ遷移部および書込み遷移部の書込み位置
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の例を表す図である。
【図５】　本発明による第１の固定された向きを示す図である。
【図６】　本発明による好ましい向きを示す図である。
【図７】　本発明による位置合わせ前後の記録された向きを示す図である。
【図８】　本発明による位置合わせ前後の記録された向きを示す図である。
【図９】　本発明による位置合わせ素子および書込み素子の長さおよび線幅を示す図であ
る。
【図１０】　本発明による位置合わせ素子および書込み素子の長さおよび線幅を示す図で
ある。
【図１１】　ａ、ｂはそれぞれ本発明による互いに平行ではない辺を有するテープヘッド
の位置合わせを示す図である。
【図１２】　本発明による位置合わせ遷移部を観測するための読取りヘッドおよび読み取
りヘッドで生成された位置合わせ遷移部に応答するデータ信号を表した図である。
【図１３】　本発明による、全体の位置合わせのための水平素子および垂直素子を有する
テープヘッドを示す図である。
【図１４】　本発明による全体的な視認による位置合わせ前の垂直素子および水平素子を
有するテープヘッドを示す図である。
【図１５】　本発明による全体的な視認による位置合わせ後の垂直素子および水平素子を
有するテープヘッドを示す図である。
【図１６】　本発明による水平素子および垂直素子の長さ、幅、および高さを示す図であ
る。
【図１７】　本発明による位置合わせ素子と対をなす読取り素子が一体となったテープヘ
ッドの平面図である。
【図１８】　ａは、本発明による、媒体に位置合わせ遷移部を書き込み、その後にその媒
体を使用し、ヘッド対媒体角を調整することで媒体の移送方向にデータヘッドを正確に位
置合わせするテープヘッドを表した図である。ｂは、さらにテープ進行方向に対し縦方向
にテープヘッド位置を調整できるテープヘッドを表した図である。
【符号の説明】
１０　テープヘッド
２０　媒体
２１、２３　相対するエッジ
３１　位置合わせ素子
３３　位置合わせ遷移部
３５　位置合わせバンド
４０　読取り素子
４１　書込み素子
４３　書込み遷移部
４５　書込みバンド
５１　読取り素子
６０　読取りヘッド
６１　水平素子
６３　第１の全体位置合わせパターン
６５　第２の全体位置合わせパターン
７０　データヘッド
７１　垂直素子
７７　第１の端部
７９　第２の端部
８１　データ素子（水平素子）
９１　書込み素子

10

20

30

40

(27) JP 3920071 B2 2007.5.30



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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